H }lj

TEMAZ T 2 RiFrk
124 & 7 5353 5135
NRLI2E9 Y 21 P sk 4

\_H

BR 5E 4

N

@A ML I (FEFEF A )
B oA 2B
R A E R AL
T OEASFEMAR
A FEARR
RIEA Mgz
e A FE@ceRdy a3 %22 (VIAVI Solutions Inc. )
# % Kevin Siebert @l *
RIE A B R (iEE At )

-3 R =10

%I*T?T—-EH"
*“TQZAF'B’T]@B’:‘%? )’}ﬁ»fg:",,,ﬁ;‘l"‘lﬁﬁ FARIR itg\@f]ll

2#17 31p 537 F 5111063100605 758 4 2> %i‘iﬁﬁié o

‘rl I€¢<

S N 9\4‘1 Az Fde M ETRIT 0 AR deT

ERAFEMATEEEE (AFEI2EL 2P B k&
8" 309 7)) FTHEF3IHDERL T AE112&12 12 2
BRw 22 FEMA FricEE >
RZQBI ST HRT ARGRTEAAZTEERE B 1%
Fan R A B B w2 R o

SR TRCH B BN AR L e o
FARTWRRA N ST G - Sl A R T 2 AT

—_



=5

|

FEMA RN 2 378 BT FPE'—-%?(&dE\)%} o

g ERR AL FE Erf‘;'ﬁﬁ i FIE 533E w1
TR T2 P B AR - %ﬁ sl L HF L § =
L oom BFAFIGRR Y zvé'ah%‘” T FlA R E & )
27 M TREREE R E%qh’ L] o AR FIVE 2 1A
"l - Hedlmd | ’m“rﬁ]u_'_Pﬁ e md | o irdH 2

d\
N)
Iy
ﬁ‘.‘? —

L2 0 e ikdp e - B IRd o £t R
M zr@d > %A%’T/zyfﬁg FEggtad | fg dipFeRs v
(B o2 l07® B2 F % 3650247 9 $B) - A2 R
2 H %ﬁmﬁ IRBEBLNERL A2 B NER2
4~5z = & & :}7;2 62. 2 & K UFEP F P % 64856155 %
T (TR EEZIDFRA2TE F PHAFE 2 52215 %257
A BB (AR e #ELIES110F ) o H {37 p3F
ENER =S Lt FUIICE S ST T\m 27i& & & 12 % 261% % 478

\\\?’{.r

%%’fljlé"?"f‘,sm Jr}vl 11/3,:‘—A ZIE\#FL,:F\J _Lil?],E y ‘Xé\"_/j'i_t 2
- fesf@d > 2 R EFEMAREFIRE 533EF1IER
Y ST

Fde A 3102872 16p 7 TR Bpg B2 R opE éfuJ o
MY EP RS X EP T %20124&7’9 165 L A
B % 61/672, 1645 5 Jlx LR BA{E > S % 102125288
%igfﬁ o fiF Fte A ’“106ﬂ&1’J 20p ¥ A 3‘;—4]:’1 % 106102014
BTRF A B RRIE %w%ﬂe' M
g;z—m S B4 F P S 16485615k 1S (T
LLfl ¥ FEAIFERE2TH) - His > 2 5L L lE
Fyrap (710612 18p B 2% ~ pE52 1p%(7) &
ﬁbz%Z%;“lm ~F 278~ %200F %27 - FAEER T
2 PeACE o REM L F A w111 E8Y 18p (111) # &

2



= (=) 04457% 5 111208175205 & fIE# % =3 & "3 &
151126%5%%\: S R 2 T RI2TE S A A 2
2t o AR FRER aM;rrs/,,\; s 0 e AZIFRR
B GNP 2 AT R DAY IR k2 a‘fﬁ\
*ETFIFT  ARATFR A E LR % 0 Wi E TR
Mo B R S A 2 BJIR R JIE R R #E
T FRBES LS S A AR B .

-~ R B %ﬂ—(‘i;i’lj“j:_@,t,’:" RE 5% I'zé-j»\;g QIR H = = | IR A R
PR AT IOEH S AL Y R A TIOR3 1P ¥ 2 kX &
FIBF & TS T RIE2THEF 2 | 2 o & 1T 2
2_ S 0 A5k
AR e X2 SR X B R 2T R wh
%gﬁﬁﬁmﬁwwzm'RT’ﬁ@ﬁW‘ﬁ%ﬁ%%*
AEPRERAE I AFREFR BRI T EGH E
B Ry giF EJE—?,%&%? FRAE2TT R 2 TP R

-)JﬁﬁéWESWWifEﬂ%f%ﬁTé.

‘.Ash

AR L A g o FRERLZE 2 %

S0 R I ROT2T 0 4 B AT 2TE I AL - 4

R BaeH 3K T2 F AL B AL TR

R HER2T OB R T gl BT RFE A28 4 X
BRI R TP e E - »abA§ 07230 2

- vfc»%f BT AEE Y= 3mm, 2 TREEY )

PR IR L SRS
m 4 Eﬁjﬁ?:’ﬁﬁz‘#/éﬁk m:}iﬁ:r%ﬁg :

= ‘795;4 ﬁ‘pg“’y‘ L}%' r;é imf\:‘r"

A
v
47%2 : 61“%:4 ) R ’éﬁ%@&iﬂ B r?‘»;v‘ Sk E -
BHdp 0 230" 2 - a2 R
my PR kX B I R 2T R g R 202 H
o ¢ 5RO HAHE M EIR2 455 bR BT



L E I RIT5 B2 SR BB LR
7 :]‘»IEZBJ%;”HMJW%WL\ FRIE2T B U F
Pl BFEIR2 47,:;'@’*’5#1;}2 4~52 % & “ER
262 %872 P (4Bl RIE2T3 LiEh o
(Z)sf 21~ w12 2004 2 k¥ @;ﬂ'%ﬁ,}%,}iﬂgw‘.ﬁ B B
El2 3483 AL 5 Ti02 > HE B pA B2 @4 ¢ v &
2380nm~680nmMAF ~ k » & £ 307 T £ B =.920nm 0 ¥
212, 3 483 42 Ti02 3 ,I‘s LAY %ﬁzfézﬁ»wxﬁ%'
y R L kL B erar LR B B it 12 Ti02H
HLAs R 2 f = 920mm > RIEEM & F kK ;Liuazfméﬁ F
272 ;zv‘ ok E - ~ 8P d p(° ,—L30°F§1— TR 2R
B A3 18mm, ~ T & ek Bk
s » KR RE A Bk £ AL LA R EES
B REI R AIGRR2TL A RS R o R AR
B o~ k¥ k2 %:%?,/g,g LY w85 a2 A
e LR )3 HERFREPEELT F‘ FFEE G R RIE 2D
2 RAE2T2 T ik B - 2 st p 0723072 - it
gz FRT A® fE'-__ 7]:;" =3 13mm, ~ T & (R B
Beo T R2 2T REBBED BH22 AL RE » k¥R
R ’#BFEE“ Bleds % ) W5 RA Z9RR o
ﬁ&%w**ﬁL@p\&%w’ii%:
P2 A Ram2T TP & st E p 072307 2B
N 13nm, g AP ARG Ee i M TY Rk
) 2Zdmit o mE > ¥ 3 B IPECVDE AT R ek B BT
pro A d gk P AL R RN TP LA s Ep(
230 F 2 -2 FRTAEEY 23 13mm ) 2 B
foo s Hberd O (£ FHEE) Wk g BRI
Pl v E A i p0 230" 2 - sa2 FiRT A
B A3, o BIR2AIET TP R A i
B0 230" A4 0] > 13nm, 2 Fivii o * FEdpd ~ 5~ 635
Ao PRI 2T T R T SRR SR A

\f“b

N

=)

_‘%&‘ \\\?{r

e

-—

s



2 TR EEEER, 0 2 RE T T RE BITHIE M
ERTUE NS 3 U8 S FIL NG S SN S
A0 RN I o S JESELY - LW )
R e B 2 Wb s b R IRBER ) 22 0 B
Tt TATERHE o A o FERHRA S5 0A G
BT BB fe o P T HPSIAERE L G AN B o P
AR IR~ 0~ 617 g R 2T B HpsF o 2
BAgtEY R EBr THIHELEFR, K &
P2~4~5-632AFHE L B RoE27 T2 £ s 8
£ p0°230°F2 -2 FRT AR E S =8 )13
2P BEER E R RoE2T B e
I~ AEZ T REFRFRE %132ﬁ$$’% REFFEE F2T00F 2
P13 F3B AT FEA B E L4 A 2L HREAT
PR 1Y BT
(H)73 £H{EF
heEF 2T FR - T FE AT e
PG
FERHL2NFER2 A2 B E N FEIR2 402 B EAEIR2 S 62
g AT IEP L BRI BN D

P

E:D

=~ 17
(a2 1078117 13p F 2428 s L B s k£ & ]
O OBEH B AIELNE  p R PR G AP 2106
E1P18p Bt > RADE 1P FZEIZRTE o
& AP o
P R UEET N
Tt £ A1 L d fFymt f o > - KRG e - 7 55T
bk o~ B2 H@D)B R RI BB RY ZR O FF S
%%%%uﬁ%ﬁé?ﬂ\fgpI;.@%,-ﬁwgﬂ¢
FhoyEdd R FRdiz - m R iTe - kB
ﬂﬁ(i Wa o = gk )Y R kS 64 1 3D

PHRRE FEF T e mL -2 LB/ E

[N %.L/‘d



FOTEE D IR o Fp > FRE G AT AL R #FI(
7‘T~E7r”800nmillOOnm)“‘7‘—7?@%‘“1—%'riﬁ‘}/f@dﬁ$°2;Q
TRIZR3 ¥- %2 5= RFRABEAFTEF &
A P2 - 3ESFEEL Gl F il —dHH$W$°%

Mmoo F 2P B EEFE A2 I BER - AR
Flb o b L FAPE R AR SR PRI 2k K
A E S BRI B R E NG EY R F R
RN R T AR R VS £E BNk TS AR o
P2 BT 2y * LB A Y A2 272G
@okﬁﬁaaaﬂ'ﬁﬁuww@ﬁﬂkﬁﬁiﬁ%w

PEY Y RF R E o SHBT ABEFEN A 2 R
2oty 0 R H PR 2 Bp R EEREZEF N
P SR ER e - A REHB IR ER Y A
800nm= 1100nmz i & &= RPN 5 5 0§ % F it F 5 2 - 375
F2o— HL e - BB AT ek s R 2.800nm 3 1
100nmz_ it & g I 25 — M0 6 Calferd i sl & Pk -
%58 F =% o Lairson® ¢ 2142 5 "Reduced Angle-Shi
ft Infrared Bandpass Filter Coatings ; 2. - < % (SPIE
2_ € ke8> 2007F > 6545% > 65451C-13% 65451C-H5F ) ¥
% Gibbons % 4 #1&42 % T Development and Implementatio

A\
"

n of a Hydrogenateda-Si Reactive Sputter Deposition
Process ) 22 - 2 R(E 2% Width € 2 & R HIIE :R2 € 2K
2edk 0 20072 > 505 23272 330F )P wHhr 7 Ak F R
‘?f.,“‘ #z i (S1HD* B aTers koo Lalrsoni%fi A T
7 1500nmz. — A& T E 5 3.22 - 755 2 = 21000nmz
Ak T E G 0. 001\* Bk rdz. - & Y 4442 - Gibbo
ns# A Tl %ﬁs’ 2o m (AC) 2 &2 2830nmz - A &
TE$3.22 - $755 7 4830nm - & T £ 5 0.00052 -
Wk iz - & PR e R g o M EF T A800
nm % 1100nm7 AEFEFRP T LG - B Mk (D
AL BT FIE[ARFEN]FL~2-56~TE) -

[=p}



2. 4 £ &A1 & BN Aok BB - Ao o
3.¢ L Al EA I
"«i’f;fl TRREAEC R o U o0 Rl o S Ao e S
AR b S 2T ﬂ\—u B AR 250 3 2 R
’ apﬁ‘fx1§25 2T % 4o
A FIFO5 I - BEBEA R B 5 iHBA o 2P A
BBheFETL PR EETREITHRHER
ﬁagz:g&gwy/giaii L_-ﬂﬁpb'y;;ﬁ&.-@%yf
Br 22t - F PP R R BY
I BT TIE N R S @ R T A S
AP0 T30 - a2 FRT A

R 2T Ao R 202 kB g B B 2R A P K2
- dTEF <33 o

S8R % iy s 47

1.8 4527%1995#37 14p =2 2. £ ®%5,398,133% "HIGH E
NDURANGE NEAR-INFRARED OPTICAL WINDOW ; % 4 % » 2o
LpHEN AL LI ELRED (2012872 16p )7 5
?Hmﬁiifwﬁﬁoa%2¥ﬂ%%%;ﬁ%ﬂh§V%J
RN R E RS BT IR b RIEF IR 8 E
Ak B R KR o F B4R AT i i o RN Rk B e
A e MGl /mE B8 G @0 FFE /LR F
= T i ] lﬁ%ﬁr} i bk B i g R B 2640 i gk B 28
kg R o b R A Ao RIL0AE T AT 2B P hF AL
kBB DR B o Tt kB UigEEF 14K
ﬁﬁ%ﬁ%?mﬁ°%%ﬁfVB@ﬁﬁ@%%m*ﬁx&

Hoa-SiNx:HiT 3 s bodendo i — K B11A T A0

AP e gk B 2804 5 o 2.800-980nmit £ = K
) F S AT BN T ¥ RSP AT et i b R AN g R
Een & £ 4 o w1040-1500nmist & 4= FIp - & 55 S
FAF o Flpt o - IR b kAR FESE o BI12AE T AT A

(3{\ *h‘“*



W hE A gk E i 5P F 0 800-1000nmge B P ik Bt
Z 18 5 99.23% 0 F B 5 18bnm 0 & 3 1T AEA Ak o
FHVR20 B B Ao A AR S A o

FEYR4 52001217 26p d14x2. TH Angus Macleod THIN-F

ILM OPTICAL FILTERS Third Edition|##*3 % 2831 292

FoHEpHE L LR (2012872 160 ) >
Foh gL LJpR 2 A m T dodk g ¢ o B G

6 = sin~! (sin * : s
S (S Gl.fn ) s 1R Ag'j el‘ff'n*-iﬂji\‘

el WAL Tl 0 ¥ o S ILB iR R BT O B4
l?i’l‘&ﬁiﬁ‘- s F g B H enfm ik o HY) x B

£ > ¥ {57 i # &
Ag= Av/vg = AL/Ag = 62 /20", (7.28)

TATFE LA 3T S I KA U o G AL L RE Tt
PR E SR o AN E R Rk YA T 0 F SRS

A P R F] 2t B g Bk K g ;I.».;g;c,t/\ o FR

6‘

R
S

NS

N L

-_N

I

Moo Pldgeonermithr’& F“ VB FEARAS RE YR FOTR AR

FTEF keI Bk * P AT E R 0 Rk Rk enF 378 S e

M AT et 2 B e F’Emn*ﬁf-?» FOORITE S o 3 AITEF D

PEAE TR E B AR > BE20RS 30& d3g

) B RHB At A gE ok B e g /%; b (FEIRA ¥ 284 F
I158F) « #3305 - [Rig*

n* = (ngnp)'? (7.34)

—_—

<

iz A PidgeonfrSmithik ¥ g % o Fm—>oco > Rin¥—nl > 4r
e A A IE AP (FEIRA % 2806 F 02 8(7) o HIpdi & B4
2] 2 00
FEYRD 5 2007& 5" 4p 2 B 2. TReduced angle-shift infr
ared bandpass filter coatings ; #jtv= /1?% » H B opHp
Bt kA R AR ED (2012877 16P ) 7 5 kX B 4l4p
BE 2. w0 b o BB Lasisrﬁr*”’iv‘ ®FBATHFHHET
AARBETEEEART DA 0 B A TR IR



TR RER cERIHOIOEE I AT PR RAOBEK
o ip T E T AMA N LT m;scxpi]v+ﬂb(xpg_;y§5
FE)-
4.7 456 52009=3 "7 18p = B 2. ¢ ® % CNI01389982A%L " »
da Bl HoBRp AR kLR iEAEP (2012
72 16p ) P T A kA B AR BE 2 kB o IR0 K- R
T xRk I B A R 0 TR 18 SRR ER LS B enk 4
& o miéfﬂiéﬂgy%*/;(l)m— AR R R R R
(2) ¥ - 53553 %25 kupid B(3) o ¥ 5 & wpid
E(2)IF 5 M /,adiﬁ » HB-F RO B(3)IF L B gk
B -5 RO S T B & e i e ki s
Ea mm; b R R B(3) A A R Rk B(2) o
a0 i bt KR B(2) A A T kG SR
)@wﬁﬁv‘om/ﬁ»ﬂi B enfEAs > A e S R Rk B(3)
sk d BN B R ERTIZA R D B o TP T X
P TR OIS O~ B R O Bpende e kif SR A d imb‘* & oo
a2 d w52~ 42 o & A2 452 B2 A BHE2 -6
2 wmE o R UEP R IGRIn2T R rn‘.
1.,%&;4] RIB2T 5 & f“’i'-idﬁ 252 “q‘/;%IE x *
272 p#iﬂfr#fﬁ:’ Fag- AR “’éii%'fif%’éi
72 Iy
3l

5y
TN
-
=z

2o— 37hF A3 o Mk & L#»:EZ?'*? #Ppl
2\4—1’_.@.\3,\‘ %2 4 5—» ‘_E'_g FE_;}}%\Z 67 &EIL‘LL —luj—

) B2mm 2 5 F 560530 F I Tk i b %
Eeee | L EWB2EP L FAHEF3Z67HE T -a-Sit H
(g *#k)/ aSiNx t H- ) ; #H2EB4%E "a-Si:
B 5 5 &)/ a-SiNx i 02 3 dide | @ #H24 1R
R 26-2% 26-4 "a-SiNx : H, #7845 51.82 0 & 26-3
"a-SicH (TE k), 4755 53,62 & 26-6 a5
iNx:H, B & 542.10nm > & 26-7 "a-Si:H, & & 5 85.26
nm ; pE.:llj%»ZHIZ;‘ \'—“FUFV; %6*&3“145“#&,&% ﬁék%‘g



ik F 0 2800~1000nm#= Fl% 5 99. 23% » # %185nm*
rE o

(2)d Fikp 7 ¥ Ao BB - AR A Hka-Si o H(E
FE)/ a-SiNx i H2 T &I mEF A ALE % Ta-S
iNx:Hy #7853t Ta-Si tH (g itw k), 3% Na-
SitH (Fa T“P’éﬁ)J Gk Bt i%AF BB Ta-SiNx:H |
2317 F A B EF A g F o 2800~10000m
FRMEFF RIS - Y FRH2TFFAALIRES
CARE N AL B IR TRERLE | B2
"a-Si t H (%iﬂp@nﬁ¢x<agﬁ + 495272
r?*i“P%J;ﬁ%Z%SWLHJwgﬂﬁaé
Pl RM2T2 T ot 5 K | B2 [ TaS
1 H (g v k) B RVEAEERB Ta-SiNx:H, 2
- FUELARE T AL BAGERE2T2 TrRE T
FRY 2D FU R ERMATHS R 21 - H |
B, 5 #¥#52 " £800~1000nm= B & 5 F % 185nm, 4p
BT AL B RaE2TL T I'}’800r1m,|_ 1100nmz. - &
R "/;M\ Tz - i d (passband)J ; 24
[ %26-3 "a-Si:H (i TLP’%)J o5 5 3.62] 48

gﬂ'\/fa_gﬂ’]. ‘I\I9277 H ’i‘_‘:ﬁiﬂ/gj%; _;}»,ﬁ_gj_
FA3y o \w—iﬁ}Z #gvﬁ R i Uk T»iEZ?nx q‘
525 T - kR RAE R G @&@% ¢ AR

2%%?%¥45“F%£?l@@%%4%’ﬂﬂﬁ
RE PR LD PRI 2
"ﬂi}:ﬁ’-’—-—ﬁ“ 2R BiRAELF - LA EZEFE
'ﬁ— v R SRV l__,t_[r‘?/;‘ :iﬂ’fjéi—i"%ﬁ’ﬁd’i?:’]"}’:&
3 PR

B)iz F st 44> k& B FIB2TEHEIH22 L B A3 1
%2%@%%,<a§«fdeEZ7rf'fﬂmw¢£§b—»@Ti
A0 230 Az — se2 ™ A® E L #]>13mm
2P BEEd 2 %Mﬁ bR R M i £ B

10



s oo d .f‘:é:—’}#ifirﬁ;cb'%é_i PR E
Pl VLTI BE L E AV TR FES RS 2
= oot o P B BEEAGE T o B BN C e i
» B "<i’%?' WP EmAask T A R HREH G
T2 ot TR o B ) BN 0 RA AR B o
(kﬂ%%ﬁﬁzkﬁ%@%%ﬁ%#ﬁ%%T’ﬁ%ﬁ%
ToAF T 48T T A2°F E G ¢ & G 1 Tnmz R #
tgh o eX ABmE LT A sE ) Z41720° > £ F -
EEFAETEG PR ST BAERE ) 0 EIRO
e T KT RFHE2Z W EEY SRR PR L
W wEEIR2 45 659%#%7% CE B Al RaE2T T
bt R R PR o SR AT 0 EIRD S Fp_%iiz 42_ ‘e
E L REB2 40288 B H2 6208 UEP L
&G RIE2TH B Mo
2hE2FFEd T Td BHRpd D57 R BITHFEMH
Ko bt T g kB R A B A 2 0 ok £ AR B A BT
Prehf g RR 0 0 s - BN EF ARG ’-‘L’r@%i}iﬁﬁ’%ﬁﬁﬂ
FAFATRE O TEY RRFE R L ¥ e
2 THEFOTHB T I * 4r & F 7o %1\”05“%/5?5?
MATEF SR e B TR 2 b > RSP s R RS R
BAAe RSP R EBBFR KT R Bk
P P 0 gL 307 0 # g R adF 13(m) e =
= (L2 FIXH1I3E » S E#Ed F 5531047 £
M F) o RE o BIHA ORGP RA2TE B
Prieorh ar sk @it ? A H 2 TRHURESF
Blg 2 RE243) "REBFHIEMP LTI TR LS
ek B A 2P A B hE P g R R
SHENEIESET Y RIS £ = R R TR L
Bz v Mgt g EBBERE | =2 0 EGRTER
o T AT E AR o A 0 BIp4 ~5 6A B RA2TE
BHF e o B P TR PIAR S S g e 0 P B

borent

N
‘x,\

11



AL~ D~ 0 v R 2T B EEE TR T A
girad ol E Bz T EESFER, > LRSS
RA A BER VR o
3. R4 FrrraAeia ki 5k ik it ]l 20094 % 29p ’QE’?“ v
W%CNIOMZIMIA%%'} (Af¥- %932 138F ) %2 %
B Y N T T IS RIP azm1ﬁ5BUJw&mJ
2 B e TCARY 4000/5000/60001 % 51 % #b -7 B -3 &= #h &
kR A (MRS - $1397154F ) v M [
r"ﬁ»p‘&‘ig ¥ r"':%?//ﬁ/}i 1 ‘51"/?155’ BBy kB R
AN 4
) :Pi’:— WAV MHBFE*““W*H Qe IR T E Ry €
CEUR S G U 28 S S o o S '»/Jif«xi SN
0’230 FFz -2 FRTAEE#23mm; = 2>
JE e TRRERE S | > & (7R m AR 5 10T 22
2 %o -F R -3k b o Gk B (R R )AE & 2 B Brewste
rdE L EZ T AHER > TEDY o E K85 bz £ 8
38. 5nmmﬁl£—”§e*§z3‘¥]i 2 (j‘F?u%?'* $87~90F ) - Ju
B REABHEUNEQE T A ATt e ksl R (K
W R)Fe & B KBrewster & £ 22 T FR & TRE KA
B AT AERLTREAS RSN LA EJIRALED

i

2o AR TERNE TAFRAE RIEE
V29T E A AR 0 R A TR R -

5 oA ’3%.%2533‘%.%7‘;%47‘ WA RNE2 452 B E K
HIR2 6208 0 F UEP X B RI2T £
CJEA AR T L A B LTJEZ??’?% * 22 R e
HEEERT TTRR E SRV = wﬂkg_ B 2, aﬂqb Hl,
o S R R AR R 0 TR T R 2TE S
G2 AETEd > B B W oo
AEHARHE G §F LR EG

FE AR BLE) (5 > B R R B

.-,5 ’),\ﬁ"\
e PR

‘;ﬁr qﬁg

N ,‘ P AR >
F - i e

12



P ABRR AT

o RIEd

9

e R PR A > Rt EZ 20 R oo o AR )
ﬁ%?\’lﬂg__!'?‘&

v NA R R d 3

=

AL
CREIE 45 KT

:ul/{%\‘ £5§‘}, °

i

F491% 2_

x EpF 4

’ )"@%&}J A-1% 1§ is20p i At
FEAAP LR Y T AR E20P pAF S FIEA
L E R G e T

IJE EY 31}\ )
FHmAm A (FiE

L

-

-

Ao 14
R ) 5200 P

; dert R E J

_ﬂ

[N
{4y
3

|~ <
).
="

>\
LT‘\‘“

Ty
—~ (5
(

NNy
oy

=~ { )/\
&
P

ES

H oLk A ?IPJ_& NS
FAWBT ~EFFRD
etz A EA B
“?:'Jf%z#;‘éi”o
L';%A‘E‘

LB g R

: NI VN

-
“-l—‘""’ L‘IB',A
5, F2r A gt H
T NI BRI TR

N AR 2\ =
= f= —%?'JILIEJ_AF]

NI SV

’

o

13




(C)2b e fF B 4 L5 F |1 PRt 2 el s 2 MEN 20 3
2 - o hF A %Emsz£%%#ﬁﬁ%°
FLE Rl s @ R (2RI EE S LF VT RA
¥ @A EFBENERTE LE BT RS 2
T ik ERUEEEE ] I A K e

4, PR A G oE A P LA 3 R
ORETIESE = R 1 f O R
CR PRI ] 2 R AR
R AR M A
F2HE0E) 0225 7 @594 EF A2 5k Fra

Bt fde b 3R 4
A LEE o

ERES: S UESRNE 3

M) B

2P

£ =

A

112 =

[UN—N
o

pull'
.

14

=

i}
‘ T\
M
A





.he-table {
  position: relative;
  width: 100%;
  table-layout: fixed;
  border-collapse: collapse;
}

.he-td {
  position: relative;
  min-height: 30px;
  line-height: 150%;
  vertical-align: top;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  border: 1px solid black;
  word-wrap: break-word;
  /*overflow: hidden; 為了TD下的DIV固定高度，把這個STYLE拿掉*/ 
}

.pen-record {
  display: flex;
  flex-direction: row;
}

.pen-record-ans {
  flex: initial;
  outline-color: #AAAAAA;
  max-width: 600px;
}

.pen-record-ques {
  flex: initial;
  outline-color: #AAAAAA;
  max-width: 600px;
}

.pen-record-text {
  flex: 1;
  outline-color: #AAAAAA;
}

.he-h1 {
  text-align: center;
  font-size: 28px;
  line-height: 185%;
}

.he-h2 {
  line-height: 150%;
}

.he-h3 {
/*  font-weight: bold;
  line-height: 200%;*/
  /*padding-left: 96px;*/
}

/*.he-button {
  position: relative;
  display: inline-block;
  cursor: pointer;
  padding: 0 4px;
  margin: 0 2px;
  background: linear-gradient(#ffffff,#E0E1E2);
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.15) inset;
  -webkit-user-select: none !important;
  transition: opacity .1s ease,background-color .1s ease,color .1s ease,box-shadow .1s ease,background .1s ease;
}

.he-button:hover {
  background: #FFF;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.35) inset, 0 0 0 0 rgba(34,36,38,.15) inset;
}*/

.ui-resizable-helper {
    border: 2px dotted #888888;
    background-color: #888888;
    opacity: .3;
}

.thin-scrollbar::-webkit-scrollbar {
    height: 10px;
    width: 10px;
}

::-webkit-scrollbar {
    height: 15px;
    width: 15px;
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
    border-radius: 5px;
    box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.6); 
    background-color: #DDDDDD;
}

/*overWrite user agent styleSheet*/
table {
    white-space: inherit;
    line-height: inherit;
    font-weight: inherit;
    font-size: inherit;
    font-style: inherit;
}

@media print {
    .page-break {
        page-break-after: always;
    }
}

/* 為了讓padding可以讓裡面長 */
* { 
  -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit */
  -moz-box-sizing: border-box;    /* Firefox, other Gecko */
  box-sizing: border-box;         /* Opera/IE 8+ */
 }

/*selection color*/
::selection{
  background: #009FCC;
}

.wordbar { 
	background: #009FCC;
}

.barcode {
	font-family: "Free 3 of 9";
}

div {
  -ms-text-justify: inter-ideograph;
}

.justify-para {
  text-align:justify;
  text-align-last:justify
 }
 
.lightbar {
	background : yellow ;
}

#loadingSpinner {
  margin: 100px auto 0;
  width: 70px;
  text-align: center;
}

#loadingSpinner > div {
  width: 18px;
  height: 18px;
  background-color: #333;
  margin-left : 10px;
  border-radius: 100%;
  display: inline-block;
  -webkit-animation: sk-bouncedelay 2.4s infinite ease-in-out both;
  animation: sk-bouncedelay 2.4s infinite ease-in-out both;
}

#loadingSpinner .bounce1 {
  -webkit-animation-delay: -1.2s;
  animation-delay: -1.2s;
}

#loadingSpinner .bounce2 {
  -webkit-animation-delay: -0.6s;
  animation-delay: -0.6s;
}

@-webkit-keyframes sk-bouncedelay {
  0%, 80%, 100% { -webkit-transform: scale(0) }
  40% { -webkit-transform: scale(1.0) }
}

@keyframes sk-bouncedelay {
  0%, 80%, 100% { 
    -webkit-transform: scale(0);
    transform: scale(0);
  } 40% { 
    -webkit-transform: scale(1.0);
    transform: scale(1.0);
  }
}

.resizableS { 
	width: 95%; 
	height: 10px; 
	position:absolute; 
	left : 0; 
	bottom: 0; 
	cursor: s-resize; 
}

.resizableE { 
	width: 10px; 
	height: 95%; 
	position:absolute; 
	right : 0; 
	top: 0; 
	cursor: e-resize; 
}

.hyperlinkText {
	color 			: blue ; 
	text-decoration : underline ;

}
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智慧財產及商業法院行政判決  
112年度行專訴字第13號
民國112年9月21日辯論終結
原      告  邱雅婷                                       
訴訟代理人  張耀暉專利師（兼送達代收人）               
輔  佐  人  李易儕                                      
訴訟代理人  呂昆餘專利師   
被      告  經濟部智慧財產局
代  表  人  廖承威             
訴訟代理人  陳俊宏             
參  加  人  美商唯亞威方案公司（VIAVI Solutions Inc.）
代  表  人  Kevin Siebert 住同上                      
訴訟代理人  謝祥揚律師（兼送達代收人）
            潘皇維律師
            李佶穎律師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國112年1月31日經訴字第11106310060號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：
　　主  文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
壹、程序事項：
一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第3項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產行政事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定。
二、按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產及商業法院仍應審酌之。修正前智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。是當事人於言詞辯論終結前向智慧財產法院提出之新證據，應限於「同一撤銷或廢止理由」，法院始應加以審酌。智慧財產案件審理法第33條第1項規定之目的雖在於減少同一專利權有效性之爭執發生多次爭訟，而容許在行政訴訟中仍得補提新證據，因而放寬專利法有關「舉發證據」提出時點之限制。然該規定仍明文限於「同一撤銷理由」，而所稱「同一撤銷理由」，依其立法目的觀之，應係指同一舉發理由，是以於行政訴訟中仍不得提出新理由，而應受專利法有關「舉發理由」提出時點之限制(最行政法院107年度判字第36號判決意旨參照)。查本件原告於提起舉發時係主張證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合足以證明發明第I648561號專利（下稱系爭專利)請求項27違反核准時專利法第22條第2項而不具進步性（見原處分乙證1卷第110頁），其後於行政訴訟階段始提出「系爭專利請求項27違反專利法第26條第4項暨專利法施行細則第18條第2項之規定」之主張，顯非基於同一撤銷理由，不符合智慧財產案件審理法第33條第1項規定，不應准許。　　
貳、實體事項：
一、事實概要：
　　參加人前於102年7月15日以「光學濾波器及感測器系統」向被告申請發明專利，並聲明以西元2012年7月16日申請之美國第61/672,164號專利案主張優先權，經編為第102125288號審查。嗣參加人於106年1月20日申請分割出第106102014號「光學濾波器及感測器系統」發明專利申請案，並經被告審查後，准予專利，發給發明第I648561號專利證書（即系爭專利，申請專利範圍共27項）。其後，原告以系爭專利違反核准時（即106年1月18日修正公布、同年5月1日施行）專利法第22條第1項、第2項、第26條第2項、第4項等規定，對之提起舉發。案經被告審查，以111年8月18日（111）智專三（二）04457字第11120817520號專利舉發審定書為「請求項1至26舉發成立，應予撤銷」及「請求項27舉發不成立」之處分。原告不服前揭舉發不成立部分之處分，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告聲明請求判決被告關於「請求項27舉發不成立」部分及訴願決定均撤銷；被告對於原告110年3月11日申請之系爭專利舉發案，應作成「請求項27舉發成立」之處分或作成適法之處分，並主張：
    在被告已經判定證據2已經公開系爭專利請求項27所界定的光學濾波器的技術內容的情況下，相關技術人員將證據2所公開的光學濾波器，利用光譜儀進行測試並通過簡單的計算，當然也會得到與系爭專利請求項27所界定「中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」完全相同的「測試結果」；是以，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據2及公知常識，可輕易完成系爭專利請求項27，系爭專利請求項27對比於證據2，當然不具進步性。退步言之，若是系爭專利權人稱利用「光譜儀」對證據2所公開的光學濾波器進行測試，無法達到系爭專利請求項27所界定「中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」之「測試結果」，則代表系爭專利請求項27缺乏記載「光學濾波器」所包含的「有別於證據2所公開的技術特徵」。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：
  ㈠原告自承證據2、證據2、4之結合、證據2、4、5之結合或證據2、6之結合，該些證據結合之差異在「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」技術特徵，系爭專利請求項27依附於請求項25之附屬項，包含請求項25所有技術特徵，證據2、4、5、6未揭示系爭專利請求項25上開之技術特徵，前開證據亦不足以證明包含請求項25全部技術特徵之請求項27不具進步性，是以，證據2，或證據2、4之結合，或證據2、4、5之結合，或證據2、6之結合不足以證明系爭專利請求項27不具進步性。
　㈡附件1、附件2僅能說明光譜儀對光學濾波器進行量測，且附
　　件1之高折射率材料為TiO2，其光學濾波器之通帶中心波長
　　在380nm~680nm間、光入射角30°改變下量值移位約20nm，附
　　件1之高折射率材料TiO2為系爭專利習用光學濾波器之材料
　　，亦為系爭專利所欲用氫化矽替換之材料，附件1之TiO2材
　　料形成之移位約20nm，無法證明包含依附請求項25之請求項
　　27之「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況
　　下在量值上移位小於13nm」、「氫化矽層」技術特徵。
　㈢又置入光譜儀之光學濾波器如果是系爭專利產品或侵權物，當然得到系爭專利請求項27之相同測試結果，惟原告未證明置入光譜儀之光學濾波器是系爭專利申請前已經存在之產品，更沒有提供光譜儀量測結果以資佐證包含依附請求項25之請求項27之「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」、「氫化矽層」技術特徵。另原告沒有提供證據證明證據2之濾波器置入光譜儀進行測試結果，相同的「測試結果」僅為原告之臆測。
四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：   
  ㈠證據2未揭示請求項27「中心波長在入射角自0°至30°間位移小於13nm」之技術特徵，甚且未見有任何有關「中心波長位移」之描述。況且，當考慮到PECVD技術所導致的厚度變化時，所產生的濾光片未必會表現出「中心波長在入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」之特徵。亦即，並非所有模擬（或實際製造）都必然會導致濾光片的「中心波長在入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」，證據2未揭示「中心波長在入射角自0°至30°間移位小於13nm」之技術特徵。又證據4、5、6均未記載請求項27技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」，且原告所謂「提高高折射率層材料之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少」、「加大高折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度」云云，僅係定性描述，並非定量描述。從而，證據4、5、6未揭露請求項27上開技術特徵。發明所屬技術領域具有通常知識者，自無從基於證據4、5、6得知請求項27上開技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」。綜上，證據2、4、5、6均未揭露系爭專利請求項27「中心波長在入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」之技術特徵，無法證明系爭專利請求項27不具進步性。
五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1
    第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並
    協議簡化爭點如下：
  ㈠不爭執事項：
    如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。
  ㈡本件爭點：
    證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之
　　組合，是否足以證明系爭專利請求項27不具進步性？
六、得心證之理由：
　㈠查被告於107年11月13日審定核准系爭專利，故系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之106年1月18日修正公布，同年5月1日施行之專利法規定為斷，合先敘明。
　㈡系爭專利技術分析:
  ⒈在一典型示意動作辨識系統中，一光源朝向一使用者發射近
    紅外線光。一個三維(3D)影像感測器偵測由該使用者反射之
    所發射光以提供該使用者之一3D影像。接著，一處理系統分
    析該3D影像以辨識由該使用者做出之一示意動作。一光學濾
    波器(更具體而言，一帶通濾波器)用以將所發射光透射至3D
    影像感測器，同時實質上阻擋周圍光。換言之，光學濾波器
    用於篩選出周圍光。因此，需要具有在近紅外線波長範圍(
    亦即，800 nm至1100nm)中之一窄通帶之一光學濾波器。參
    考圖1至圖3，第一、第二及第三習用光學濾波器通常具有在
    通帶內之一高透射率位準及在通帶外側之一高阻擋位準。然
    而，通帶之中心波長隨著入射角之改變經受一相對大移位。
    因此，通帶必須相對寬以接受在所需入射角範圍內之光，從
    而增加經透射之周圍光之量且減小併入有此等習用光學濾波
    器之系統之信雜比。此外，濾波器堆疊及阻擋堆疊中之大數
    目之層增加製作此等習用光學濾波器中所涉及之費用及塗佈
    時間。大總塗層厚度亦使得難以(例如)藉由光微影來圖案化
    此等習用光學濾波器。為增強示意動作辨識系統中之光學濾
    波器之效能，將期望減少層之數目、總塗層厚度及隨著入射
    角改變之中心波長移位。一種方法係針對高折射率層使用在
    800nm至1100nm之波長範圍內具有比習用氧化物高之一折射
    率之一材料。除一較高折射率以外，材料亦必須在800nm至1
    100nm之波長範圍內具有一低消光係數以便在通帶內提供一
    高透射率位準。Lairson等人在標題為「Reduced Angle-Shi
    ft Infrared Bandpass Filter Coatings」之一文章(SPIE
    之會議記錄，2007年，6545卷，65451C-1至65451C-5頁)中
    及Gibbons等人在標題為「Development and Implementatio
    n of a Hydrogenateda-Si Reactive Sputter Deposition
    Process」之一文章(真空塗佈機協會之年度技術會議之會議
    記錄，2007年，50卷，327至330頁)中皆揭示了在光學濾波
    器中將氫化矽(Si：H)用於高折射率層。Lairson等人揭示了
    在1500nm之一波長下具有3.2之一折射率且在大於1000nm之
    波長下具有小於0.001之一消光係數之一氫化矽材料。Gibbo
    ns等人揭示了藉由交流電(AC)濺鍍生產之在830nm之一波長
    下具有3.2之一折射率且在830nm之一波長下具有0.0005之一
    消光係數之一氫化矽材料。遺憾地，此等氫化矽材料在800
    nm至1100nm之波長範圍內並不具有一合適低消光係數(摘自
    系爭專利說明書第1頁[先前技術]第1、2、5、6、7段)。　
　⒉系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。
　⒊申請專利範圍分析:
    系爭專利核准公告時申請專利範圍之請求項總計27 項，與
    本件相關者為請求項27，因該項為請求項25獨立項之附屬項
    ，是請求項25、27內容如下：
　  請求項25：一種光學濾波器，其包含：複數個層，其中該複
　　　 　　　 數個層包括若干氫化矽層及若干較低折射率層，
　　　        其中該等氫化矽層中之至少一者比該等較低折射
　　　        率層中之至少一者更厚，且其中該光學濾波器具
　　　        有一通帶且該通帶具有一中心波長，且該中心波
　　　        長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在
　　　        量值上移位小於13nm。
     請求項27:如請求項25之光學濾波器，其中該等氫化矽層之
              一折射率大於3。
　 ㈢舉發證據技術分析:
   ⒈證據2係1995年3月14日公告之美國第5,398,133號「HIGH E
　　 NDURANGE NEAR-INFRARED OPTICAL WINDOW」專利案，其公
　　 告日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)可為系爭專
　　 利相關之先前技術。證據2第5欄第28至60行揭露「除了近
　　 紅外光流線式濾光器外，還可以使用疊加原理實現其他類
　　 型的光學濾光器。當圖4中所示的近紅外光流線式濾光器的
　　 基板背面用低通濾光器28塗佈時，得到窄帶通濾光器。窄
　　 帶通的位置係藉由近紅外光高通濾光器26和低通濾光器28
　　 的層的數量和厚度而確定。圖10顯示基於本發明的窄帶通
　　 濾光器的結構的截面圖。近紅外光高通濾光器有14層，低
　　 通濾光器28有13層。表3描述了13層低通濾光器的結構參數
　　 ，其中a-SiNx:H作為離基板最遠的最後一層圖11顯示基於
　　 本發明的低通濾光器28的透射率。在800-980nm波長範圍內
　　 ，透射率超過95%並且與圖5中所示的近紅外光流線式濾光
　　 器的透射帶重疊。在1040-1500nm波長範圍內，透射率幾乎
　　 等於零。因此，一部分近紅外光被阻擋。圖12顯示基於本
　　 發明的窄帶通濾光器的透射率。800-1000nm範圍內的透射
　　 率峰值為99.23%，帶寬為185nm，具有近似矩形的形狀」，
　　 證據2主要圖式如本判決附圖二所示。
   ⒉證據4為2001年1月26日出版之「H Angus Macleod THIN-F       ILM OPTICAL FILTERS Third Edition｣教科書第283至292
     頁，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，
     可為系爭專利相關之先前技術。如果在空氣中的入射角為
     Θi，[image: ]，以及Δg以Θi和n*之形式
     求出。傾斜之效應，接著，此理想的濾光片可以從入射角
     與隔離層折射率的知識中被簡單的估計出來。對於小入射
     角，可得到相移為：
     [image: ]

     這裡隔離層折射率n*決定它如何靈活的傾斜：較高的折射率影響濾光片較少。對於真實的濾光片而言，反射器也受到傾斜的影響，因此計算峰值波長的變化就更投入。然而，Pidgeon和Smith表明，這種相移類似於從具有隔離層折射率n*的理想濾光片中所得到，濾光片層的高折射率和低折射率之間的中間的n*稱為有效折射率。有效折射率的概念適用於相當高的入射角度，高達20度或30度，甚至更高，具體取決於組成濾光片的多層的折射率(證據4第284頁第1至15行)。對於第一階濾光片　　　　　　　　　　　[image: ]

　　 這是Pidgeon和Smith獲得的結果。當m→∞，則n*→nH，如同我們所預期(證據4第286頁第5至8行)。證據4主要圖式如本判決附圖三所示。　　                     
   ⒊證據5為2007年5月4日公開之「Reduced angle-shift infrared bandpass filter coatings」技術文獻，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，可為系爭專利相關之先前技術。在整個堆疊設計中使用高折射率材料可以大大提高給定塗層厚度下的性能，或者大大降低實現設計所需的總厚度。證據5討論了通過多層氫化矽實現的幾種設計，這些設計展示了在傾斜入射角下的改進性能(參證據5摘要)。
   ⒋證據6為2009年3月18日公開之中國第CN101389982A號「分色镜」專利案，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，可為系爭專利相關之先前技術。證據6提供一種即使雜散光的入射角變大，亦能使雜散光難以透射的分色鏡。玻璃等透明基板(1)的一面形成有第1多層膜濾波器(2)，在另一面形成有第2多層膜濾波器(3)。將多層膜濾波器(2)作為低通濾波器，將多層膜濾波器(3)作為高通濾波器。並將多層膜設計成因入射角的變化導致的分光透射特性的偏移，在多層膜濾波器(3)大於在多層膜濾波器(2)。從而，即使在多層膜濾波器(2)產生因分光透射特性的偏移而應被遮光的波長透射的情形，亦能借助多層膜濾波器(3)的分光透射特性的偏移來遮断該波長的透射。因此，可大幅降低以較大入射角入射的雜散光透射過分色镜的比率。
   ㈣證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合，不足以證明系爭專利請求項27不具進步性: 
   ⒈系爭專利請求項27為依附於請求項25之附屬項，包含請求項27之所有技術特徵，並進一步界定「其中該等氫化矽層之一折射率大於3」。將系爭專利請求項27與證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合比對可知:
　　 ⑴證據2說明書第1欄第60至30行揭露「…窄帶通濾光器…」；證據2說明書第4欄第3至6行揭露「…a-Si：H(即氫化矽層)/ a-SiNx：H…」；證據2圖4揭露「a-Si：H(即氫化矽層)/ a-SiNx：H交互堆疊」：證據2表1揭露層26-2及26-4「a-SiNx：H」的折射率為1.82，層26-3「a-Si：H (即氫化矽層)」折射率為3.62，層26-6「a-SiNx:H」厚度為42.10nm，層26-7「a-Si:H」厚度為85.26nm；證據2圖12及說明書第6欄第1至5行揭露一種窄帶通濾波器，在800~1000nm範圍透射率99.23%，帶寬185nm等內容。
     ⑵由上述內容可知，證據2揭示一種使用複數a-Si：H(氫化
　     矽層)/ a-SiNx：H交互堆疊實現窄帶通濾光器，該「a-S
　     iNx:H」折射率小於「a-Si：H (即氫化矽層)」，該「a-
　     Si：H (即氫化矽層)」的厚度比該複數個「a-SiNx:H」      之至少一者更厚，其中該窄帶通濾波器，在800~1000nm
　     範圍內具有帶寬185nm 。其中， 證據2「窄帶通濾光器
　     」相當於系爭專利請求項27之「光學濾波器」；證據2
　     「a-Si：H (即氫化矽層)」相當於系爭專利請求項27之
　     「若干氫化矽層」；證據2「a-SiNx：H」相當於系爭專
　     利請求項27之「若干較低折射率層」；證據2【該「a-S
　     i：H (即氫化矽層)」的厚度比該複數個「a-SiNx:H」之
　     至少一者更厚】相當於系爭專利請求項27之「該等氫化
　     矽層中之至少一者比該等較低折射率層中之至少一者更
　     厚」；證據2「在800~1000nm範圍內具有帶寬185nm」相
　     當於系爭專利請求項27之「具有與800nm至1100nm之一波
　     長範圍至少部分重疊之一通帶(passband)」；證據2表1
　     【層26-3「a-Si：H (即氫化矽層)」折射率為3.62】相
　     當於系爭專利請求項27之「其中該等氫化矽層之一折射
　     率大於3」，故證據2已揭示系爭專利請求項27依附請求
　     項25「一種光學濾波器，其包含：複數個層，其中該複
　     數個層包括若干氫化矽層及若干較低折射率層，其中該
　     等氫化矽層中之至少一者比該等較低折射率層中之至少
　     一者更厚，且其中該光學濾波器具有一通帶且該通帶具
　     有一中心波長」與「其中該等氫化矽層之一折射率大於
　     3」技術特徵。
     ⑶依上述比對，系爭專利請求項27與證據2之差異在於：證
　     據2未揭示系爭專利請求項27「且該中心波長在一入射角
　     自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」
　     之技術特徵。舉發理由書第54頁第6行雖主張「上述差異
　     技術特徵為功效技術特徵，由結構特徵所產生功效技術
　     特徵，可為所屬技術領域具有通常知識者輕易完成」云
　     云。惟查，上開技術特徵為「必要技術特徵」已如前述
　     ，且系爭專利說明書均未主張「上述差異技術特徵」為
　     原告所稱「功效技術特徵」情況下，原告主張不足採。
     ⑷證據4未教示或建議如何取捨折射率的情況下，證據5揭
　     示在特定入射角48°至42°間具有中心波長為17nm之偏移
　     幅度，但並未揭露在「入射角」為41°至0°時，是否仍一
　     直保持在「具有中心波長為17nm之偏移幅度」，證據6
　     僅為定性教示光學膜厚之比值與中心波長的移位幅度之
　     關係，故證據2、4、5、6均未揭示系爭專利請求項27「
　     上述差異技術特徵」。綜上所述，證據2；證據2、4之組
　     合；證據2、4、5之組合；證據2、6之組合不足以證明系
　     爭專利請求項27不具進步性。
   ⒉原告舉發理由書雖稱：「由證據4、5可知提高折射率層材料之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少，故而此一技術特徵為所屬技術領域具有通常知識者，可運用被舉發案申請時之通常知識輕易完成」、「證據6亦揭露可利用加大高折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度，給予如何減少中心波長偏移幅度之教示…使中心波長在光入射角自0°改變至30°時，移位幅度維持在13(nm)以內」云云（參見乙證1卷第113頁，專利舉發理由書第53至54頁表格內容）。然查，證據4、5、6均未記載請求項27上開技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之『特定數值與範圍』，且原告所謂「提高折射率層材料之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少」、「加大-折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度」云云，僅係定性描述，並非定量描述。從而，證據4、5、6未揭露請求項27上開技術特徵。發明所屬技術領域具有通常知識者，自無從基於證據4、5、6得知請求項27上開技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」，是以原告此部分主張不可採。
　 ⒊原告行政訴訟起訴狀主張依附件1：2009年4月29日公開中國第CN101421641A號專利（本院卷一第93至138頁）及附件2：台灣安捷倫科技股份有限公司」於2011年5月1日所印刷公開的「CARY 4000/5000/6000I系列紫外-可見-近紅外分光光度計」型錄（本院卷一第139至154頁）可證明「利用『光譜儀』對『光學濾波器』進行測試，以取得該光學濾波器於特定入射角所對應的中心波長」為本領域的公知常識，將證據2依上述相同於附件1及2的證據方法，當然也會得到與系爭專利請求項27所界定「中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」完全相同的「測試結果」，又參行政訴訟起訴狀第10頁以附件2之紫外-可見-近紅外分光光度計(光譜儀)配合調整Brewster角支架設定入射角度，可得到中心波長從851.5nm位移至838.5nm的波長-穿透率圖云云(本院卷一第87、90頁)。惟查，原告未舉證以附件2紫外-可見-近紅外分光光度計 (光譜儀)配合調整Brewster角支架對「待測品，即光學濾波器」是否為證據2所實施產品，抑或早於系爭專利優先權日之前，顯然無法將該「待測品，即光學濾波器」視為與證
     據2所實施產品相同，故原告所述不足採。   
七、綜上所述，證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合，不足以證明系爭專利請求項27不具進步性
　　，從而，被告所為系爭專利請求項27舉發不成立之原處分，符合法律規定，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並作成「請求項27舉發成立」之處分，為無理由，應予駁回。
八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資
　　料經本院斟酌後，認與判決結果沒有影響，無逐一論述的必
　　要。
九、結論：本件原告之訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　
中　　華　　民　　國　　112 　年　　10 　 月　　12　　日
                          智慧財產第二庭
                            審判長法  官　彭洪英
                                  法  官　汪漢卿
                                  法  官　曾啓謀
以上正本係照原本作成。
一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。
三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
		得不委任律師為訴訟代理人之情形

		所  需  要  件



		㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人

		1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。
2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。
3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。



		㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

		1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。
2.稅務行政事件，具備會計師資格者。
3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。



		是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。

		








 中　　華　　民　　國　　112 　年　　10 　　月　 23 　日
　　　　　　　　　　　　　          書記官　丘若瑤

智慧財產及商業法院行政判決  

112年度行專訴字第13號

民國112年9月21日辯論終結

原      告  邱雅婷                                       

訴訟代理人  張耀暉專利師（兼送達代收人）               

輔  佐  人  李易儕                                      

訴訟代理人  呂昆餘專利師   

被      告  經濟部智慧財產局

代  表  人  廖承威             

訴訟代理人  陳俊宏             

參  加  人  美商唯亞威方案公司（VIAVI Solutions Inc.）

代  表  人  Kevin Siebert 住同上                      

訴訟代理人  謝祥揚律師（兼送達代收人）

            潘皇維律師

            李佶穎律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11

2年1月31日經訴字第11106310060號訴願決定，提起行政訴訟，

並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

　　主  文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

壹、程序事項：

一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年

    8月30日施行）第75條第3項前段規定：本法112年1月12日修

    正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產行政事件，適用

    本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施

    行前繫屬於本院，應適用修正前之規定。

二、按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產及商業法院仍應審酌之。修正前智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。是當事人於言詞辯論終結前向智慧財產法院提出之新證據，應限於「同一撤銷或廢止理由」，法院始應加以審酌。智慧財產案件審理法第33條第1項規定之目的雖在於減少同一專利權有效性之爭執發生多次爭訟，而容許在行政訴訟中仍得補提新證據，因而放寬專利法有關「舉發證據」提出時點之限制。然該規定仍明文限於「同一撤銷理由」，而所稱「同一撤銷理由」，依其立法目的觀之，應係指同一舉發理由，是以於行政訴訟中仍不得提出新理由，而應受專利法有關「舉發理由」提出時點之限制(最行政法院107年度判字第36號判決意旨參照)。查本件原告於提起舉發時係主張證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合足以證明發明第I648561號專利（下稱系爭專利)請求項27違反核准時專利法第22條第2項而不具進步性（見原處分乙證1卷第110頁），其後於行政訴訟階段始提出「系爭專利請求項27違反專利法第26條第4項暨專利法施行細則第18條第2項之規定」之主張，顯非基於同一撤銷理由，不符合智慧財產案件審理法第33條第1項規定，不應准許。　　

貳、實體事項：

一、事實概要：

　　參加人前於102年7月15日以「光學濾波器及感測器系統」向

    被告申請發明專利，並聲明以西元2012年7月16日申請之美

    國第61/672,164號專利案主張優先權，經編為第102125288

    號審查。嗣參加人於106年1月20日申請分割出第106102014

    號「光學濾波器及感測器系統」發明專利申請案，並經被告

    審查後，准予專利，發給發明第I648561號專利證書（即系

    爭專利，申請專利範圍共27項）。其後，原告以系爭專利違

    反核准時（即106年1月18日修正公布、同年5月1日施行）專

    利法第22條第1項、第2項、第26條第2項、第4項等規定，對

    之提起舉發。案經被告審查，以111年8月18日（111）智專

    三（二）04457字第11120817520號專利舉發審定書為「請求

    項1至26舉發成立，應予撤銷」及「請求項27舉發不成立」

    之處分。原告不服前揭舉發不成立部分之處分，提起訴願，

    復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起

    本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及

    原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害

    ，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明請求判決被告關於「請求項27舉發不成立」部分及

    訴願決定均撤銷；被告對於原告110年3月11日申請之系爭專

    利舉發案，應作成「請求項27舉發成立」之處分或作成適法

    之處分，並主張：

    在被告已經判定證據2已經公開系爭專利請求項27所界定的

    光學濾波器的技術內容的情況下，相關技術人員將證據2所

    公開的光學濾波器，利用光譜儀進行測試並通過簡單的計算

    ，當然也會得到與系爭專利請求項27所界定「中心波長在一

    入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13n

    m」完全相同的「測試結果」；是以，系爭專利所屬技術領

    域中具有通常知識者，參酌證據2及公知常識，可輕易完成

    系爭專利請求項27，系爭專利請求項27對比於證據2，當然

    不具進步性。退步言之，若是系爭專利權人稱利用「光譜儀

    」對證據2所公開的光學濾波器進行測試，無法達到系爭專

    利請求項27所界定「中心波長在一入射角自0°至30°間之一

    改變之情況下在量值上移位小於13nm」之「測試結果」，則

    代表系爭專利請求項27缺乏記載「光學濾波器」所包含的「

    有別於證據2所公開的技術特徵」。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

  ㈠原告自承證據2、證據2、4之結合、證據2、4、5之結合或證

    據2、6之結合，該些證據結合之差異在「該中心波長在一入

    射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm

    」技術特徵，系爭專利請求項27依附於請求項25之附屬項，

    包含請求項25所有技術特徵，證據2、4、5、6未揭示系爭專

    利請求項25上開之技術特徵，前開證據亦不足以證明包含請

    求項25全部技術特徵之請求項27不具進步性，是以，證據2

    ，或證據2、4之結合，或證據2、4、5之結合，或證據2、6

    之結合不足以證明系爭專利請求項27不具進步性。

　㈡附件1、附件2僅能說明光譜儀對光學濾波器進行量測，且附

　　件1之高折射率材料為TiO2，其光學濾波器之通帶中心波長

　　在380nm~680nm間、光入射角30°改變下量值移位約20nm，附

　　件1之高折射率材料TiO2為系爭專利習用光學濾波器之材料

　　，亦為系爭專利所欲用氫化矽替換之材料，附件1之TiO2材

　　料形成之移位約20nm，無法證明包含依附請求項25之請求項

　　27之「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況

　　下在量值上移位小於13nm」、「氫化矽層」技術特徵。

　㈢又置入光譜儀之光學濾波器如果是系爭專利產品或侵權物，

    當然得到系爭專利請求項27之相同測試結果，惟原告未證明

    置入光譜儀之光學濾波器是系爭專利申請前已經存在之產品

    ，更沒有提供光譜儀量測結果以資佐證包含依附請求項25之

    請求項27之「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變

    之情況下在量值上移位小於13nm」、「氫化矽層」技術特徵

    。另原告沒有提供證據證明證據2之濾波器置入光譜儀進行

    測試結果，相同的「測試結果」僅為原告之臆測。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：   

  ㈠證據2未揭示請求項27「中心波長在入射角自0°至30°間位移

    小於13nm」之技術特徵，甚且未見有任何有關「中心波長位

    移」之描述。況且，當考慮到PECVD技術所導致的厚度變化

    時，所產生的濾光片未必會表現出「中心波長在入射角自0°

    至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」之特徵

    。亦即，並非所有模擬（或實際製造）都必然會導致濾光片

    的「中心波長在入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量

    值上位移小於13nm」，證據2未揭示「中心波長在入射角自0

    °至30°間移位小於13nm」之技術特徵。又證據4、5、6均未

    記載請求項27技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之

    「特定數值與範圍」，且原告所謂「提高高折射率層材料之

    折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移

    位幅度減少」、「加大高折射率層之光學膜厚與低折射率層

    的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度」云云，僅係定

    性描述，並非定量描述。從而，證據4、5、6未揭露請求項2

    7上開技術特徵。發明所屬技術領域具有通常知識者，自無

    從基於證據4、5、6得知請求項27上開技術特徵所界定入射

    角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」。綜上，證據

    2、4、5、6均未揭露系爭專利請求項27「中心波長在入射角

    自0°至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」之

    技術特徵，無法證明系爭專利請求項27不具進步性。

五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1

    第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並

    協議簡化爭點如下：

  ㈠不爭執事項：

    如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。

  ㈡本件爭點：

    證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之

　　組合，是否足以證明系爭專利請求項27不具進步性？

六、得心證之理由：

　㈠查被告於107年11月13日審定核准系爭專利，故系爭專利是否

    有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之106年1

    月18日修正公布，同年5月1日施行之專利法規定為斷，合先

    敘明。

　㈡系爭專利技術分析:

  ⒈在一典型示意動作辨識系統中，一光源朝向一使用者發射近

    紅外線光。一個三維(3D)影像感測器偵測由該使用者反射之

    所發射光以提供該使用者之一3D影像。接著，一處理系統分

    析該3D影像以辨識由該使用者做出之一示意動作。一光學濾

    波器(更具體而言，一帶通濾波器)用以將所發射光透射至3D

    影像感測器，同時實質上阻擋周圍光。換言之，光學濾波器

    用於篩選出周圍光。因此，需要具有在近紅外線波長範圍(

    亦即，800 nm至1100nm)中之一窄通帶之一光學濾波器。參

    考圖1至圖3，第一、第二及第三習用光學濾波器通常具有在

    通帶內之一高透射率位準及在通帶外側之一高阻擋位準。然

    而，通帶之中心波長隨著入射角之改變經受一相對大移位。

    因此，通帶必須相對寬以接受在所需入射角範圍內之光，從

    而增加經透射之周圍光之量且減小併入有此等習用光學濾波

    器之系統之信雜比。此外，濾波器堆疊及阻擋堆疊中之大數

    目之層增加製作此等習用光學濾波器中所涉及之費用及塗佈

    時間。大總塗層厚度亦使得難以(例如)藉由光微影來圖案化

    此等習用光學濾波器。為增強示意動作辨識系統中之光學濾

    波器之效能，將期望減少層之數目、總塗層厚度及隨著入射

    角改變之中心波長移位。一種方法係針對高折射率層使用在

    800nm至1100nm之波長範圍內具有比習用氧化物高之一折射

    率之一材料。除一較高折射率以外，材料亦必須在800nm至1

    100nm之波長範圍內具有一低消光係數以便在通帶內提供一

    高透射率位準。Lairson等人在標題為「Reduced Angle-Shi

    ft Infrared Bandpass Filter Coatings」之一文章(SPIE

    之會議記錄，2007年，6545卷，65451C-1至65451C-5頁)中

    及Gibbons等人在標題為「Development and Implementatio

    n of a Hydrogenateda-Si Reactive Sputter Deposition

    Process」之一文章(真空塗佈機協會之年度技術會議之會議

    記錄，2007年，50卷，327至330頁)中皆揭示了在光學濾波

    器中將氫化矽(Si：H)用於高折射率層。Lairson等人揭示了

    在1500nm之一波長下具有3.2之一折射率且在大於1000nm之

    波長下具有小於0.001之一消光係數之一氫化矽材料。Gibbo

    ns等人揭示了藉由交流電(AC)濺鍍生產之在830nm之一波長

    下具有3.2之一折射率且在830nm之一波長下具有0.0005之一

    消光係數之一氫化矽材料。遺憾地，此等氫化矽材料在800

    nm至1100nm之波長範圍內並不具有一合適低消光係數(摘自

    系爭專利說明書第1頁[先前技術]第1、2、5、6、7段)。　

　⒉系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。

　⒊申請專利範圍分析:

    系爭專利核准公告時申請專利範圍之請求項總計27 項，與

    本件相關者為請求項27，因該項為請求項25獨立項之附屬項

    ，是請求項25、27內容如下：

　  請求項25：一種光學濾波器，其包含：複數個層，其中該複

　　　 　　　 數個層包括若干氫化矽層及若干較低折射率層，

　　　        其中該等氫化矽層中之至少一者比該等較低折射

　　　        率層中之至少一者更厚，且其中該光學濾波器具

　　　        有一通帶且該通帶具有一中心波長，且該中心波

　　　        長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在

　　　        量值上移位小於13nm。

     請求項27:如請求項25之光學濾波器，其中該等氫化矽層之

              一折射率大於3。

　 ㈢舉發證據技術分析:

   ⒈證據2係1995年3月14日公告之美國第5,398,133號「HIGH E

　　 NDURANGE NEAR-INFRARED OPTICAL WINDOW」專利案，其公

　　 告日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)可為系爭專

　　 利相關之先前技術。證據2第5欄第28至60行揭露「除了近

　　 紅外光流線式濾光器外，還可以使用疊加原理實現其他類

　　 型的光學濾光器。當圖4中所示的近紅外光流線式濾光器的

　　 基板背面用低通濾光器28塗佈時，得到窄帶通濾光器。窄

　　 帶通的位置係藉由近紅外光高通濾光器26和低通濾光器28

　　 的層的數量和厚度而確定。圖10顯示基於本發明的窄帶通

　　 濾光器的結構的截面圖。近紅外光高通濾光器有14層，低

　　 通濾光器28有13層。表3描述了13層低通濾光器的結構參數

　　 ，其中a-SiNx:H作為離基板最遠的最後一層圖11顯示基於

　　 本發明的低通濾光器28的透射率。在800-980nm波長範圍內

　　 ，透射率超過95%並且與圖5中所示的近紅外光流線式濾光

　　 器的透射帶重疊。在1040-1500nm波長範圍內，透射率幾乎

　　 等於零。因此，一部分近紅外光被阻擋。圖12顯示基於本

　　 發明的窄帶通濾光器的透射率。800-1000nm範圍內的透射

　　 率峰值為99.23%，帶寬為185nm，具有近似矩形的形狀」，

　　 證據2主要圖式如本判決附圖二所示。

   ⒉證據4為2001年1月26日出版之「H Angus Macleod THIN-F  

     ILM OPTICAL FILTERS Third Edition｣教科書第283至292

     頁，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，

     可為系爭專利相關之先前技術。如果在空氣中的入射角為

     Θi，，以及Δg以Θi和n*之形式

     求出。傾斜之效應，接著，此理想的濾光片可以從入射角

     與隔離層折射率的知識中被簡單的估計出來。對於小入射

     角，可得到相移為：

     

     這裡隔離層折射率n*決定它如何靈活的傾斜：較高的折射率影響濾光片較少。對於真實的濾光片而言，反射器也受到傾斜的影響，因此計算峰值波長的變化就更投入。然而，Pidgeon和Smith表明，這種相移類似於從具有隔離層折射率n*的理想濾光片中所得到，濾光片層的高折射率和低折射率之間的中間的n*稱為有效折射率。有效折射率的概念適用於相當高的入射角度，高達20度或30度，甚至更高，具體取決於組成濾光片的多層的折射率(證據4第284頁第1至15行)。對於第一階濾光片　　　　　　　　　　　

　　 這是Pidgeon和Smith獲得的結果。當m→∞，則n*→nH，如同我們所預期(證據4第286頁第5至8行)。證據4主要圖式如本判決附圖三所示。　　                     

   ⒊證據5為2007年5月4日公開之「Reduced angle-shift infra

     red bandpass filter coatings」技術文獻，其公開日期

     早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，可為系爭專利相

     關之先前技術。在整個堆疊設計中使用高折射率材料可以

     大大提高給定塗層厚度下的性能，或者大大降低實現設計

     所需的總厚度。證據5討論了通過多層氫化矽實現的幾種設

     計，這些設計展示了在傾斜入射角下的改進性能(參證據5

     摘要)。

   ⒋證據6為2009年3月18日公開之中國第CN101389982A號「分色

     镜」專利案，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7

     月16日)，可為系爭專利相關之先前技術。證據6提供一種

     即使雜散光的入射角變大，亦能使雜散光難以透射的分色

     鏡。玻璃等透明基板(1)的一面形成有第1多層膜濾波器(2)

     ，在另一面形成有第2多層膜濾波器(3)。將多層膜濾波器(

     2)作為低通濾波器，將多層膜濾波器(3)作為高通濾波器。

     並將多層膜設計成因入射角的變化導致的分光透射特性的

     偏移，在多層膜濾波器(3)大於在多層膜濾波器(2)。從而

     ，即使在多層膜濾波器(2)產生因分光透射特性的偏移而應

     被遮光的波長透射的情形，亦能借助多層膜濾波器(3)的分

     光透射特性的偏移來遮断該波長的透射。因此，可大幅降

     低以較大入射角入射的雜散光透射過分色镜的比率。

   ㈣證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之

     組合，不足以證明系爭專利請求項27不具進步性: 

   ⒈系爭專利請求項27為依附於請求項25之附屬項，包含請求項

     27之所有技術特徵，並進一步界定「其中該等氫化矽層之

     一折射率大於3」。將系爭專利請求項27與證據2或證據2、

     4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合比對可知:

　　 ⑴證據2說明書第1欄第60至30行揭露「…窄帶通濾光器…」；

       證據2說明書第4欄第3至6行揭露「…a-Si：H(即氫化矽層

       )/ a-SiNx：H…」；證據2圖4揭露「a-Si：H(即氫化矽層

       )/ a-SiNx：H交互堆疊」：證據2表1揭露層26-2及26-4

       「a-SiNx：H」的折射率為1.82，層26-3「a-Si：H (即

       氫化矽層)」折射率為3.62，層26-6「a-SiNx:H」厚度為

       42.10nm，層26-7「a-Si:H」厚度為85.26nm；證據2圖12

       及說明書第6欄第1至5行揭露一種窄帶通濾波器，在800~

       1000nm範圍透射率99.23%，帶寬185nm等內容。

     ⑵由上述內容可知，證據2揭示一種使用複數a-Si：H(氫化

　     矽層)/ a-SiNx：H交互堆疊實現窄帶通濾光器，該「a-S

　     iNx:H」折射率小於「a-Si：H (即氫化矽層)」，該「a-

　     Si：H (即氫化矽層)」的厚度比該複數個「a-SiNx:H」 

        之至少一者更厚，其中該窄帶通濾波器，在800~1000nm

　     範圍內具有帶寬185nm 。其中， 證據2「窄帶通濾光器

　     」相當於系爭專利請求項27之「光學濾波器」；證據2

　     「a-Si：H (即氫化矽層)」相當於系爭專利請求項27之

　     「若干氫化矽層」；證據2「a-SiNx：H」相當於系爭專

　     利請求項27之「若干較低折射率層」；證據2【該「a-S

　     i：H (即氫化矽層)」的厚度比該複數個「a-SiNx:H」之

　     至少一者更厚】相當於系爭專利請求項27之「該等氫化

　     矽層中之至少一者比該等較低折射率層中之至少一者更

　     厚」；證據2「在800~1000nm範圍內具有帶寬185nm」相

　     當於系爭專利請求項27之「具有與800nm至1100nm之一波

　     長範圍至少部分重疊之一通帶(passband)」；證據2表1

　     【層26-3「a-Si：H (即氫化矽層)」折射率為3.62】相

　     當於系爭專利請求項27之「其中該等氫化矽層之一折射

　     率大於3」，故證據2已揭示系爭專利請求項27依附請求

　     項25「一種光學濾波器，其包含：複數個層，其中該複

　     數個層包括若干氫化矽層及若干較低折射率層，其中該

　     等氫化矽層中之至少一者比該等較低折射率層中之至少

　     一者更厚，且其中該光學濾波器具有一通帶且該通帶具

　     有一中心波長」與「其中該等氫化矽層之一折射率大於

　     3」技術特徵。

     ⑶依上述比對，系爭專利請求項27與證據2之差異在於：證

　     據2未揭示系爭專利請求項27「且該中心波長在一入射角

　     自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」

　     之技術特徵。舉發理由書第54頁第6行雖主張「上述差異

　     技術特徵為功效技術特徵，由結構特徵所產生功效技術

　     特徵，可為所屬技術領域具有通常知識者輕易完成」云

　     云。惟查，上開技術特徵為「必要技術特徵」已如前述

　     ，且系爭專利說明書均未主張「上述差異技術特徵」為

　     原告所稱「功效技術特徵」情況下，原告主張不足採。

     ⑷證據4未教示或建議如何取捨折射率的情況下，證據5揭

　     示在特定入射角48°至42°間具有中心波長為17nm之偏移

　     幅度，但並未揭露在「入射角」為41°至0°時，是否仍一

　     直保持在「具有中心波長為17nm之偏移幅度」，證據6

　     僅為定性教示光學膜厚之比值與中心波長的移位幅度之

　     關係，故證據2、4、5、6均未揭示系爭專利請求項27「

　     上述差異技術特徵」。綜上所述，證據2；證據2、4之組

　     合；證據2、4、5之組合；證據2、6之組合不足以證明系

　     爭專利請求項27不具進步性。

   ⒉原告舉發理由書雖稱：「由證據4、5可知提高折射率層材料

     之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時

     的移位幅度減少，故而此一技術特徵為所屬技術領域具有

     通常知識者，可運用被舉發案申請時之通常知識輕易完成

     」、「證據6亦揭露可利用加大高折射率層之光學膜厚與低

     折射率層的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度，給

     予如何減少中心波長偏移幅度之教示…使中心波長在光入射

     角自0°改變至30°時，移位幅度維持在13(nm)以內」云云（

     參見乙證1卷第113頁，專利舉發理由書第53至54頁表格內

     容）。然查，證據4、5、6均未記載請求項27上開技術特徵

     所界定入射角變化與中心波長移位之『特定數值與範圍』，

     且原告所謂「提高折射率層材料之折射率可使光學濾波器

     通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少」、「加

     大-折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比，以

     減少中心波長偏移幅度」云云，僅係定性描述，並非定量

     描述。從而，證據4、5、6未揭露請求項27上開技術特徵。

     發明所屬技術領域具有通常知識者，自無從基於證據4、5

     、6得知請求項27上開技術特徵所界定入射角變化與中心波

     長移位之「特定數值與範圍」，是以原告此部分主張不可

     採。

　 ⒊原告行政訴訟起訴狀主張依附件1：2009年4月29日公開中國

     第CN101421641A號專利（本院卷一第93至138頁）及附件2

     ：台灣安捷倫科技股份有限公司」於2011年5月1日所印刷

     公開的「CARY 4000/5000/6000I系列紫外-可見-近紅外分

     光光度計」型錄（本院卷一第139至154頁）可證明「利用『

     光譜儀』對『光學濾波器』進行測試，以取得該光學濾波器於

     特定入射角所對應的中心波長」為本領域的公知常識，將

     證據2依上述相同於附件1及2的證據方法，當然也會得到與

     系爭專利請求項27所界定「中心波長在一入射角自0°至30°

     間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」完全相同的

     「測試結果」，又參行政訴訟起訴狀第10頁以附件2之紫外

     -可見-近紅外分光光度計(光譜儀)配合調整Brewster角支

     架設定入射角度，可得到中心波長從851.5nm位移至838.5n

     m的波長-穿透率圖云云(本院卷一第87、90頁)。惟查，原

     告未舉證以附件2紫外-可見-近紅外分光光度計 (光譜儀)

     配合調整Brewster角支架對「待測品，即光學濾波器」是

     否為證據2所實施產品，抑或早於系爭專利優先權日之前，

     顯然無法將該「待測品，即光學濾波器」視為與證

     據2所實施產品相同，故原告所述不足採。   

七、綜上所述，證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或

    證據2、6之組合，不足以證明系爭專利請求項27不具進步性

　　，從而，被告所為系爭專利請求項27舉發不成立之原處分，

    符合法律規定，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前

    詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並作成「請求項27舉發成

    立」之處分，為無理由，應予駁回。

八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資

　　料經本院斟酌後，認與判決結果沒有影響，無逐一論述的必

　　要。

九、結論：本件原告之訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理

    法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　

中　　華　　民　　國　　112 　年　　10 　 月　　12　　日

                          智慧財產第二庭

                            審判長法  官　彭洪英

                                  法  官　汪漢卿

                                  法  官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表

    明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內

    向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提

    起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按

    他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，

    逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟

    法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不

    委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形 所  需  要  件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。  

 中　　華　　民　　國　　112 　年　　10 　　月　 23 　日

　　　　　　　　　　　　　          書記官　丘若瑤




智慧財產及商業法院行政判決  
112年度行專訴字第13號
民國112年9月21日辯論終結
原      告  邱雅婷                                       
訴訟代理人  張耀暉專利師（兼送達代收人）               
輔  佐  人  李易儕                                      
訴訟代理人  呂昆餘專利師   
被      告  經濟部智慧財產局
代  表  人  廖承威             
訴訟代理人  陳俊宏             
參  加  人  美商唯亞威方案公司（VIAVI Solutions Inc.）
代  表  人  Kevin Siebert 住同上                      
訴訟代理人  謝祥揚律師（兼送達代收人）
            潘皇維律師
            李佶穎律師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國112年1月31日經訴字第11106310060號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：
　　主  文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
壹、程序事項：
一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第3項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產行政事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定。
二、按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產及商業法院仍應審酌之。修正前智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。是當事人於言詞辯論終結前向智慧財產法院提出之新證據，應限於「同一撤銷或廢止理由」，法院始應加以審酌。智慧財產案件審理法第33條第1項規定之目的雖在於減少同一專利權有效性之爭執發生多次爭訟，而容許在行政訴訟中仍得補提新證據，因而放寬專利法有關「舉發證據」提出時點之限制。然該規定仍明文限於「同一撤銷理由」，而所稱「同一撤銷理由」，依其立法目的觀之，應係指同一舉發理由，是以於行政訴訟中仍不得提出新理由，而應受專利法有關「舉發理由」提出時點之限制(最行政法院107年度判字第36號判決意旨參照)。查本件原告於提起舉發時係主張證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合足以證明發明第I648561號專利（下稱系爭專利)請求項27違反核准時專利法第22條第2項而不具進步性（見原處分乙證1卷第110頁），其後於行政訴訟階段始提出「系爭專利請求項27違反專利法第26條第4項暨專利法施行細則第18條第2項之規定」之主張，顯非基於同一撤銷理由，不符合智慧財產案件審理法第33條第1項規定，不應准許。　　
貳、實體事項：
一、事實概要：
　　參加人前於102年7月15日以「光學濾波器及感測器系統」向被告申請發明專利，並聲明以西元2012年7月16日申請之美國第61/672,164號專利案主張優先權，經編為第102125288號審查。嗣參加人於106年1月20日申請分割出第106102014號「光學濾波器及感測器系統」發明專利申請案，並經被告審查後，准予專利，發給發明第I648561號專利證書（即系爭專利，申請專利範圍共27項）。其後，原告以系爭專利違反核准時（即106年1月18日修正公布、同年5月1日施行）專利法第22條第1項、第2項、第26條第2項、第4項等規定，對之提起舉發。案經被告審查，以111年8月18日（111）智專三（二）04457字第11120817520號專利舉發審定書為「請求項1至26舉發成立，應予撤銷」及「請求項27舉發不成立」之處分。原告不服前揭舉發不成立部分之處分，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告聲明請求判決被告關於「請求項27舉發不成立」部分及訴願決定均撤銷；被告對於原告110年3月11日申請之系爭專利舉發案，應作成「請求項27舉發成立」之處分或作成適法之處分，並主張：
    在被告已經判定證據2已經公開系爭專利請求項27所界定的光學濾波器的技術內容的情況下，相關技術人員將證據2所公開的光學濾波器，利用光譜儀進行測試並通過簡單的計算，當然也會得到與系爭專利請求項27所界定「中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」完全相同的「測試結果」；是以，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據2及公知常識，可輕易完成系爭專利請求項27，系爭專利請求項27對比於證據2，當然不具進步性。退步言之，若是系爭專利權人稱利用「光譜儀」對證據2所公開的光學濾波器進行測試，無法達到系爭專利請求項27所界定「中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」之「測試結果」，則代表系爭專利請求項27缺乏記載「光學濾波器」所包含的「有別於證據2所公開的技術特徵」。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：
  ㈠原告自承證據2、證據2、4之結合、證據2、4、5之結合或證據2、6之結合，該些證據結合之差異在「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」技術特徵，系爭專利請求項27依附於請求項25之附屬項，包含請求項25所有技術特徵，證據2、4、5、6未揭示系爭專利請求項25上開之技術特徵，前開證據亦不足以證明包含請求項25全部技術特徵之請求項27不具進步性，是以，證據2，或證據2、4之結合，或證據2、4、5之結合，或證據2、6之結合不足以證明系爭專利請求項27不具進步性。
　㈡附件1、附件2僅能說明光譜儀對光學濾波器進行量測，且附
　　件1之高折射率材料為TiO2，其光學濾波器之通帶中心波長
　　在380nm~680nm間、光入射角30°改變下量值移位約20nm，附
　　件1之高折射率材料TiO2為系爭專利習用光學濾波器之材料
　　，亦為系爭專利所欲用氫化矽替換之材料，附件1之TiO2材
　　料形成之移位約20nm，無法證明包含依附請求項25之請求項
　　27之「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況
　　下在量值上移位小於13nm」、「氫化矽層」技術特徵。
　㈢又置入光譜儀之光學濾波器如果是系爭專利產品或侵權物，當然得到系爭專利請求項27之相同測試結果，惟原告未證明置入光譜儀之光學濾波器是系爭專利申請前已經存在之產品，更沒有提供光譜儀量測結果以資佐證包含依附請求項25之請求項27之「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」、「氫化矽層」技術特徵。另原告沒有提供證據證明證據2之濾波器置入光譜儀進行測試結果，相同的「測試結果」僅為原告之臆測。
四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：   
  ㈠證據2未揭示請求項27「中心波長在入射角自0°至30°間位移小於13nm」之技術特徵，甚且未見有任何有關「中心波長位移」之描述。況且，當考慮到PECVD技術所導致的厚度變化時，所產生的濾光片未必會表現出「中心波長在入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」之特徵。亦即，並非所有模擬（或實際製造）都必然會導致濾光片的「中心波長在入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」，證據2未揭示「中心波長在入射角自0°至30°間移位小於13nm」之技術特徵。又證據4、5、6均未記載請求項27技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」，且原告所謂「提高高折射率層材料之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少」、「加大高折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度」云云，僅係定性描述，並非定量描述。從而，證據4、5、6未揭露請求項27上開技術特徵。發明所屬技術領域具有通常知識者，自無從基於證據4、5、6得知請求項27上開技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」。綜上，證據2、4、5、6均未揭露系爭專利請求項27「中心波長在入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」之技術特徵，無法證明系爭專利請求項27不具進步性。
五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1
    第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並
    協議簡化爭點如下：
  ㈠不爭執事項：
    如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。
  ㈡本件爭點：
    證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之
　　組合，是否足以證明系爭專利請求項27不具進步性？
六、得心證之理由：
　㈠查被告於107年11月13日審定核准系爭專利，故系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之106年1月18日修正公布，同年5月1日施行之專利法規定為斷，合先敘明。
　㈡系爭專利技術分析:
  ⒈在一典型示意動作辨識系統中，一光源朝向一使用者發射近
    紅外線光。一個三維(3D)影像感測器偵測由該使用者反射之
    所發射光以提供該使用者之一3D影像。接著，一處理系統分
    析該3D影像以辨識由該使用者做出之一示意動作。一光學濾
    波器(更具體而言，一帶通濾波器)用以將所發射光透射至3D
    影像感測器，同時實質上阻擋周圍光。換言之，光學濾波器
    用於篩選出周圍光。因此，需要具有在近紅外線波長範圍(
    亦即，800 nm至1100nm)中之一窄通帶之一光學濾波器。參
    考圖1至圖3，第一、第二及第三習用光學濾波器通常具有在
    通帶內之一高透射率位準及在通帶外側之一高阻擋位準。然
    而，通帶之中心波長隨著入射角之改變經受一相對大移位。
    因此，通帶必須相對寬以接受在所需入射角範圍內之光，從
    而增加經透射之周圍光之量且減小併入有此等習用光學濾波
    器之系統之信雜比。此外，濾波器堆疊及阻擋堆疊中之大數
    目之層增加製作此等習用光學濾波器中所涉及之費用及塗佈
    時間。大總塗層厚度亦使得難以(例如)藉由光微影來圖案化
    此等習用光學濾波器。為增強示意動作辨識系統中之光學濾
    波器之效能，將期望減少層之數目、總塗層厚度及隨著入射
    角改變之中心波長移位。一種方法係針對高折射率層使用在
    800nm至1100nm之波長範圍內具有比習用氧化物高之一折射
    率之一材料。除一較高折射率以外，材料亦必須在800nm至1
    100nm之波長範圍內具有一低消光係數以便在通帶內提供一
    高透射率位準。Lairson等人在標題為「Reduced Angle-Shi
    ft Infrared Bandpass Filter Coatings」之一文章(SPIE
    之會議記錄，2007年，6545卷，65451C-1至65451C-5頁)中
    及Gibbons等人在標題為「Development and Implementatio
    n of a Hydrogenateda-Si Reactive Sputter Deposition
    Process」之一文章(真空塗佈機協會之年度技術會議之會議
    記錄，2007年，50卷，327至330頁)中皆揭示了在光學濾波
    器中將氫化矽(Si：H)用於高折射率層。Lairson等人揭示了
    在1500nm之一波長下具有3.2之一折射率且在大於1000nm之
    波長下具有小於0.001之一消光係數之一氫化矽材料。Gibbo
    ns等人揭示了藉由交流電(AC)濺鍍生產之在830nm之一波長
    下具有3.2之一折射率且在830nm之一波長下具有0.0005之一
    消光係數之一氫化矽材料。遺憾地，此等氫化矽材料在800
    nm至1100nm之波長範圍內並不具有一合適低消光係數(摘自
    系爭專利說明書第1頁[先前技術]第1、2、5、6、7段)。　
　⒉系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。
　⒊申請專利範圍分析:
    系爭專利核准公告時申請專利範圍之請求項總計27 項，與
    本件相關者為請求項27，因該項為請求項25獨立項之附屬項
    ，是請求項25、27內容如下：
　  請求項25：一種光學濾波器，其包含：複數個層，其中該複
　　　 　　　 數個層包括若干氫化矽層及若干較低折射率層，
　　　        其中該等氫化矽層中之至少一者比該等較低折射
　　　        率層中之至少一者更厚，且其中該光學濾波器具
　　　        有一通帶且該通帶具有一中心波長，且該中心波
　　　        長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在
　　　        量值上移位小於13nm。
     請求項27:如請求項25之光學濾波器，其中該等氫化矽層之
              一折射率大於3。
　 ㈢舉發證據技術分析:
   ⒈證據2係1995年3月14日公告之美國第5,398,133號「HIGH E
　　 NDURANGE NEAR-INFRARED OPTICAL WINDOW」專利案，其公
　　 告日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)可為系爭專
　　 利相關之先前技術。證據2第5欄第28至60行揭露「除了近
　　 紅外光流線式濾光器外，還可以使用疊加原理實現其他類
　　 型的光學濾光器。當圖4中所示的近紅外光流線式濾光器的
　　 基板背面用低通濾光器28塗佈時，得到窄帶通濾光器。窄
　　 帶通的位置係藉由近紅外光高通濾光器26和低通濾光器28
　　 的層的數量和厚度而確定。圖10顯示基於本發明的窄帶通
　　 濾光器的結構的截面圖。近紅外光高通濾光器有14層，低
　　 通濾光器28有13層。表3描述了13層低通濾光器的結構參數
　　 ，其中a-SiNx:H作為離基板最遠的最後一層圖11顯示基於
　　 本發明的低通濾光器28的透射率。在800-980nm波長範圍內
　　 ，透射率超過95%並且與圖5中所示的近紅外光流線式濾光
　　 器的透射帶重疊。在1040-1500nm波長範圍內，透射率幾乎
　　 等於零。因此，一部分近紅外光被阻擋。圖12顯示基於本
　　 發明的窄帶通濾光器的透射率。800-1000nm範圍內的透射
　　 率峰值為99.23%，帶寬為185nm，具有近似矩形的形狀」，
　　 證據2主要圖式如本判決附圖二所示。
   ⒉證據4為2001年1月26日出版之「H Angus Macleod THIN-F       ILM OPTICAL FILTERS Third Edition｣教科書第283至292
     頁，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，
     可為系爭專利相關之先前技術。如果在空氣中的入射角為
     Θi，[image: ]，以及Δg以Θi和n*之形式
     求出。傾斜之效應，接著，此理想的濾光片可以從入射角
     與隔離層折射率的知識中被簡單的估計出來。對於小入射
     角，可得到相移為：
     [image: ]

     這裡隔離層折射率n*決定它如何靈活的傾斜：較高的折射率影響濾光片較少。對於真實的濾光片而言，反射器也受到傾斜的影響，因此計算峰值波長的變化就更投入。然而，Pidgeon和Smith表明，這種相移類似於從具有隔離層折射率n*的理想濾光片中所得到，濾光片層的高折射率和低折射率之間的中間的n*稱為有效折射率。有效折射率的概念適用於相當高的入射角度，高達20度或30度，甚至更高，具體取決於組成濾光片的多層的折射率(證據4第284頁第1至15行)。對於第一階濾光片　　　　　　　　　　　[image: ]

　　 這是Pidgeon和Smith獲得的結果。當m→∞，則n*→nH，如同我們所預期(證據4第286頁第5至8行)。證據4主要圖式如本判決附圖三所示。　　                     
   ⒊證據5為2007年5月4日公開之「Reduced angle-shift infrared bandpass filter coatings」技術文獻，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，可為系爭專利相關之先前技術。在整個堆疊設計中使用高折射率材料可以大大提高給定塗層厚度下的性能，或者大大降低實現設計所需的總厚度。證據5討論了通過多層氫化矽實現的幾種設計，這些設計展示了在傾斜入射角下的改進性能(參證據5摘要)。
   ⒋證據6為2009年3月18日公開之中國第CN101389982A號「分色镜」專利案，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，可為系爭專利相關之先前技術。證據6提供一種即使雜散光的入射角變大，亦能使雜散光難以透射的分色鏡。玻璃等透明基板(1)的一面形成有第1多層膜濾波器(2)，在另一面形成有第2多層膜濾波器(3)。將多層膜濾波器(2)作為低通濾波器，將多層膜濾波器(3)作為高通濾波器。並將多層膜設計成因入射角的變化導致的分光透射特性的偏移，在多層膜濾波器(3)大於在多層膜濾波器(2)。從而，即使在多層膜濾波器(2)產生因分光透射特性的偏移而應被遮光的波長透射的情形，亦能借助多層膜濾波器(3)的分光透射特性的偏移來遮断該波長的透射。因此，可大幅降低以較大入射角入射的雜散光透射過分色镜的比率。
   ㈣證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合，不足以證明系爭專利請求項27不具進步性: 
   ⒈系爭專利請求項27為依附於請求項25之附屬項，包含請求項27之所有技術特徵，並進一步界定「其中該等氫化矽層之一折射率大於3」。將系爭專利請求項27與證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合比對可知:
　　 ⑴證據2說明書第1欄第60至30行揭露「…窄帶通濾光器…」；證據2說明書第4欄第3至6行揭露「…a-Si：H(即氫化矽層)/ a-SiNx：H…」；證據2圖4揭露「a-Si：H(即氫化矽層)/ a-SiNx：H交互堆疊」：證據2表1揭露層26-2及26-4「a-SiNx：H」的折射率為1.82，層26-3「a-Si：H (即氫化矽層)」折射率為3.62，層26-6「a-SiNx:H」厚度為42.10nm，層26-7「a-Si:H」厚度為85.26nm；證據2圖12及說明書第6欄第1至5行揭露一種窄帶通濾波器，在800~1000nm範圍透射率99.23%，帶寬185nm等內容。
     ⑵由上述內容可知，證據2揭示一種使用複數a-Si：H(氫化
　     矽層)/ a-SiNx：H交互堆疊實現窄帶通濾光器，該「a-S
　     iNx:H」折射率小於「a-Si：H (即氫化矽層)」，該「a-
　     Si：H (即氫化矽層)」的厚度比該複數個「a-SiNx:H」      之至少一者更厚，其中該窄帶通濾波器，在800~1000nm
　     範圍內具有帶寬185nm 。其中， 證據2「窄帶通濾光器
　     」相當於系爭專利請求項27之「光學濾波器」；證據2
　     「a-Si：H (即氫化矽層)」相當於系爭專利請求項27之
　     「若干氫化矽層」；證據2「a-SiNx：H」相當於系爭專
　     利請求項27之「若干較低折射率層」；證據2【該「a-S
　     i：H (即氫化矽層)」的厚度比該複數個「a-SiNx:H」之
　     至少一者更厚】相當於系爭專利請求項27之「該等氫化
　     矽層中之至少一者比該等較低折射率層中之至少一者更
　     厚」；證據2「在800~1000nm範圍內具有帶寬185nm」相
　     當於系爭專利請求項27之「具有與800nm至1100nm之一波
　     長範圍至少部分重疊之一通帶(passband)」；證據2表1
　     【層26-3「a-Si：H (即氫化矽層)」折射率為3.62】相
　     當於系爭專利請求項27之「其中該等氫化矽層之一折射
　     率大於3」，故證據2已揭示系爭專利請求項27依附請求
　     項25「一種光學濾波器，其包含：複數個層，其中該複
　     數個層包括若干氫化矽層及若干較低折射率層，其中該
　     等氫化矽層中之至少一者比該等較低折射率層中之至少
　     一者更厚，且其中該光學濾波器具有一通帶且該通帶具
　     有一中心波長」與「其中該等氫化矽層之一折射率大於
　     3」技術特徵。
     ⑶依上述比對，系爭專利請求項27與證據2之差異在於：證
　     據2未揭示系爭專利請求項27「且該中心波長在一入射角
　     自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」
　     之技術特徵。舉發理由書第54頁第6行雖主張「上述差異
　     技術特徵為功效技術特徵，由結構特徵所產生功效技術
　     特徵，可為所屬技術領域具有通常知識者輕易完成」云
　     云。惟查，上開技術特徵為「必要技術特徵」已如前述
　     ，且系爭專利說明書均未主張「上述差異技術特徵」為
　     原告所稱「功效技術特徵」情況下，原告主張不足採。
     ⑷證據4未教示或建議如何取捨折射率的情況下，證據5揭
　     示在特定入射角48°至42°間具有中心波長為17nm之偏移
　     幅度，但並未揭露在「入射角」為41°至0°時，是否仍一
　     直保持在「具有中心波長為17nm之偏移幅度」，證據6
　     僅為定性教示光學膜厚之比值與中心波長的移位幅度之
　     關係，故證據2、4、5、6均未揭示系爭專利請求項27「
　     上述差異技術特徵」。綜上所述，證據2；證據2、4之組
　     合；證據2、4、5之組合；證據2、6之組合不足以證明系
　     爭專利請求項27不具進步性。
   ⒉原告舉發理由書雖稱：「由證據4、5可知提高折射率層材料之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少，故而此一技術特徵為所屬技術領域具有通常知識者，可運用被舉發案申請時之通常知識輕易完成」、「證據6亦揭露可利用加大高折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度，給予如何減少中心波長偏移幅度之教示…使中心波長在光入射角自0°改變至30°時，移位幅度維持在13(nm)以內」云云（參見乙證1卷第113頁，專利舉發理由書第53至54頁表格內容）。然查，證據4、5、6均未記載請求項27上開技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之『特定數值與範圍』，且原告所謂「提高折射率層材料之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少」、「加大-折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度」云云，僅係定性描述，並非定量描述。從而，證據4、5、6未揭露請求項27上開技術特徵。發明所屬技術領域具有通常知識者，自無從基於證據4、5、6得知請求項27上開技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」，是以原告此部分主張不可採。
　 ⒊原告行政訴訟起訴狀主張依附件1：2009年4月29日公開中國第CN101421641A號專利（本院卷一第93至138頁）及附件2：台灣安捷倫科技股份有限公司」於2011年5月1日所印刷公開的「CARY 4000/5000/6000I系列紫外-可見-近紅外分光光度計」型錄（本院卷一第139至154頁）可證明「利用『光譜儀』對『光學濾波器』進行測試，以取得該光學濾波器於特定入射角所對應的中心波長」為本領域的公知常識，將證據2依上述相同於附件1及2的證據方法，當然也會得到與系爭專利請求項27所界定「中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」完全相同的「測試結果」，又參行政訴訟起訴狀第10頁以附件2之紫外-可見-近紅外分光光度計(光譜儀)配合調整Brewster角支架設定入射角度，可得到中心波長從851.5nm位移至838.5nm的波長-穿透率圖云云(本院卷一第87、90頁)。惟查，原告未舉證以附件2紫外-可見-近紅外分光光度計 (光譜儀)配合調整Brewster角支架對「待測品，即光學濾波器」是否為證據2所實施產品，抑或早於系爭專利優先權日之前，顯然無法將該「待測品，即光學濾波器」視為與證
     據2所實施產品相同，故原告所述不足採。   
七、綜上所述，證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合，不足以證明系爭專利請求項27不具進步性
　　，從而，被告所為系爭專利請求項27舉發不成立之原處分，符合法律規定，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並作成「請求項27舉發成立」之處分，為無理由，應予駁回。
八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資
　　料經本院斟酌後，認與判決結果沒有影響，無逐一論述的必
　　要。
九、結論：本件原告之訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　
中　　華　　民　　國　　112 　年　　10 　 月　　12　　日
                          智慧財產第二庭
                            審判長法  官　彭洪英
                                  法  官　汪漢卿
                                  法  官　曾啓謀
以上正本係照原本作成。
一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。
三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
		得不委任律師為訴訟代理人之情形

		所  需  要  件



		㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人

		1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。
2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。
3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。



		㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

		1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。
2.稅務行政事件，具備會計師資格者。
3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。



		是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。

		








 中　　華　　民　　國　　112 　年　　10 　　月　 23 　日
　　　　　　　　　　　　　          書記官　丘若瑤

智慧財產及商業法院行政判決  

112年度行專訴字第13號

民國112年9月21日辯論終結

原      告  邱雅婷                                       

訴訟代理人  張耀暉專利師（兼送達代收人）               

輔  佐  人  李易儕                                      

訴訟代理人  呂昆餘專利師   

被      告  經濟部智慧財產局

代  表  人  廖承威             

訴訟代理人  陳俊宏             

參  加  人  美商唯亞威方案公司（VIAVI Solutions Inc.）

代  表  人  Kevin Siebert 住同上                      

訴訟代理人  謝祥揚律師（兼送達代收人）

            潘皇維律師

            李佶穎律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國112年1月31日經訴字第11106310060號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

　　主  文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

壹、程序事項：

一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第3項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產行政事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定。

二、按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產及商業法院仍應審酌之。修正前智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。是當事人於言詞辯論終結前向智慧財產法院提出之新證據，應限於「同一撤銷或廢止理由」，法院始應加以審酌。智慧財產案件審理法第33條第1項規定之目的雖在於減少同一專利權有效性之爭執發生多次爭訟，而容許在行政訴訟中仍得補提新證據，因而放寬專利法有關「舉發證據」提出時點之限制。然該規定仍明文限於「同一撤銷理由」，而所稱「同一撤銷理由」，依其立法目的觀之，應係指同一舉發理由，是以於行政訴訟中仍不得提出新理由，而應受專利法有關「舉發理由」提出時點之限制(最行政法院107年度判字第36號判決意旨參照)。查本件原告於提起舉發時係主張證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合足以證明發明第I648561號專利（下稱系爭專利)請求項27違反核准時專利法第22條第2項而不具進步性（見原處分乙證1卷第110頁），其後於行政訴訟階段始提出「系爭專利請求項27違反專利法第26條第4項暨專利法施行細則第18條第2項之規定」之主張，顯非基於同一撤銷理由，不符合智慧財產案件審理法第33條第1項規定，不應准許。　　

貳、實體事項：

一、事實概要：

　　參加人前於102年7月15日以「光學濾波器及感測器系統」向被告申請發明專利，並聲明以西元2012年7月16日申請之美國第61/672,164號專利案主張優先權，經編為第102125288號審查。嗣參加人於106年1月20日申請分割出第106102014號「光學濾波器及感測器系統」發明專利申請案，並經被告審查後，准予專利，發給發明第I648561號專利證書（即系爭專利，申請專利範圍共27項）。其後，原告以系爭專利違反核准時（即106年1月18日修正公布、同年5月1日施行）專利法第22條第1項、第2項、第26條第2項、第4項等規定，對之提起舉發。案經被告審查，以111年8月18日（111）智專三（二）04457字第11120817520號專利舉發審定書為「請求項1至26舉發成立，應予撤銷」及「請求項27舉發不成立」之處分。原告不服前揭舉發不成立部分之處分，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明請求判決被告關於「請求項27舉發不成立」部分及訴願決定均撤銷；被告對於原告110年3月11日申請之系爭專利舉發案，應作成「請求項27舉發成立」之處分或作成適法之處分，並主張：

    在被告已經判定證據2已經公開系爭專利請求項27所界定的光學濾波器的技術內容的情況下，相關技術人員將證據2所公開的光學濾波器，利用光譜儀進行測試並通過簡單的計算，當然也會得到與系爭專利請求項27所界定「中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」完全相同的「測試結果」；是以，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據2及公知常識，可輕易完成系爭專利請求項27，系爭專利請求項27對比於證據2，當然不具進步性。退步言之，若是系爭專利權人稱利用「光譜儀」對證據2所公開的光學濾波器進行測試，無法達到系爭專利請求項27所界定「中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」之「測試結果」，則代表系爭專利請求項27缺乏記載「光學濾波器」所包含的「有別於證據2所公開的技術特徵」。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

  ㈠原告自承證據2、證據2、4之結合、證據2、4、5之結合或證據2、6之結合，該些證據結合之差異在「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」技術特徵，系爭專利請求項27依附於請求項25之附屬項，包含請求項25所有技術特徵，證據2、4、5、6未揭示系爭專利請求項25上開之技術特徵，前開證據亦不足以證明包含請求項25全部技術特徵之請求項27不具進步性，是以，證據2，或證據2、4之結合，或證據2、4、5之結合，或證據2、6之結合不足以證明系爭專利請求項27不具進步性。

　㈡附件1、附件2僅能說明光譜儀對光學濾波器進行量測，且附

　　件1之高折射率材料為TiO2，其光學濾波器之通帶中心波長

　　在380nm~680nm間、光入射角30°改變下量值移位約20nm，附

　　件1之高折射率材料TiO2為系爭專利習用光學濾波器之材料

　　，亦為系爭專利所欲用氫化矽替換之材料，附件1之TiO2材

　　料形成之移位約20nm，無法證明包含依附請求項25之請求項

　　27之「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況

　　下在量值上移位小於13nm」、「氫化矽層」技術特徵。

　㈢又置入光譜儀之光學濾波器如果是系爭專利產品或侵權物，當然得到系爭專利請求項27之相同測試結果，惟原告未證明置入光譜儀之光學濾波器是系爭專利申請前已經存在之產品，更沒有提供光譜儀量測結果以資佐證包含依附請求項25之請求項27之「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」、「氫化矽層」技術特徵。另原告沒有提供證據證明證據2之濾波器置入光譜儀進行測試結果，相同的「測試結果」僅為原告之臆測。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：   

  ㈠證據2未揭示請求項27「中心波長在入射角自0°至30°間位移小於13nm」之技術特徵，甚且未見有任何有關「中心波長位移」之描述。況且，當考慮到PECVD技術所導致的厚度變化時，所產生的濾光片未必會表現出「中心波長在入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」之特徵。亦即，並非所有模擬（或實際製造）都必然會導致濾光片的「中心波長在入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」，證據2未揭示「中心波長在入射角自0°至30°間移位小於13nm」之技術特徵。又證據4、5、6均未記載請求項27技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」，且原告所謂「提高高折射率層材料之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少」、「加大高折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度」云云，僅係定性描述，並非定量描述。從而，證據4、5、6未揭露請求項27上開技術特徵。發明所屬技術領域具有通常知識者，自無從基於證據4、5、6得知請求項27上開技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」。綜上，證據2、4、5、6均未揭露系爭專利請求項27「中心波長在入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」之技術特徵，無法證明系爭專利請求項27不具進步性。

五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1

    第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並

    協議簡化爭點如下：

  ㈠不爭執事項：

    如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。

  ㈡本件爭點：

    證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之

　　組合，是否足以證明系爭專利請求項27不具進步性？

六、得心證之理由：

　㈠查被告於107年11月13日審定核准系爭專利，故系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之106年1月18日修正公布，同年5月1日施行之專利法規定為斷，合先敘明。

　㈡系爭專利技術分析:

  ⒈在一典型示意動作辨識系統中，一光源朝向一使用者發射近

    紅外線光。一個三維(3D)影像感測器偵測由該使用者反射之

    所發射光以提供該使用者之一3D影像。接著，一處理系統分

    析該3D影像以辨識由該使用者做出之一示意動作。一光學濾

    波器(更具體而言，一帶通濾波器)用以將所發射光透射至3D

    影像感測器，同時實質上阻擋周圍光。換言之，光學濾波器

    用於篩選出周圍光。因此，需要具有在近紅外線波長範圍(

    亦即，800 nm至1100nm)中之一窄通帶之一光學濾波器。參

    考圖1至圖3，第一、第二及第三習用光學濾波器通常具有在

    通帶內之一高透射率位準及在通帶外側之一高阻擋位準。然

    而，通帶之中心波長隨著入射角之改變經受一相對大移位。

    因此，通帶必須相對寬以接受在所需入射角範圍內之光，從

    而增加經透射之周圍光之量且減小併入有此等習用光學濾波

    器之系統之信雜比。此外，濾波器堆疊及阻擋堆疊中之大數

    目之層增加製作此等習用光學濾波器中所涉及之費用及塗佈

    時間。大總塗層厚度亦使得難以(例如)藉由光微影來圖案化

    此等習用光學濾波器。為增強示意動作辨識系統中之光學濾

    波器之效能，將期望減少層之數目、總塗層厚度及隨著入射

    角改變之中心波長移位。一種方法係針對高折射率層使用在

    800nm至1100nm之波長範圍內具有比習用氧化物高之一折射

    率之一材料。除一較高折射率以外，材料亦必須在800nm至1

    100nm之波長範圍內具有一低消光係數以便在通帶內提供一

    高透射率位準。Lairson等人在標題為「Reduced Angle-Shi

    ft Infrared Bandpass Filter Coatings」之一文章(SPIE

    之會議記錄，2007年，6545卷，65451C-1至65451C-5頁)中

    及Gibbons等人在標題為「Development and Implementatio

    n of a Hydrogenateda-Si Reactive Sputter Deposition

    Process」之一文章(真空塗佈機協會之年度技術會議之會議

    記錄，2007年，50卷，327至330頁)中皆揭示了在光學濾波

    器中將氫化矽(Si：H)用於高折射率層。Lairson等人揭示了

    在1500nm之一波長下具有3.2之一折射率且在大於1000nm之

    波長下具有小於0.001之一消光係數之一氫化矽材料。Gibbo

    ns等人揭示了藉由交流電(AC)濺鍍生產之在830nm之一波長

    下具有3.2之一折射率且在830nm之一波長下具有0.0005之一

    消光係數之一氫化矽材料。遺憾地，此等氫化矽材料在800

    nm至1100nm之波長範圍內並不具有一合適低消光係數(摘自

    系爭專利說明書第1頁[先前技術]第1、2、5、6、7段)。　

　⒉系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。

　⒊申請專利範圍分析:

    系爭專利核准公告時申請專利範圍之請求項總計27 項，與

    本件相關者為請求項27，因該項為請求項25獨立項之附屬項

    ，是請求項25、27內容如下：

　  請求項25：一種光學濾波器，其包含：複數個層，其中該複

　　　 　　　 數個層包括若干氫化矽層及若干較低折射率層，

　　　        其中該等氫化矽層中之至少一者比該等較低折射

　　　        率層中之至少一者更厚，且其中該光學濾波器具

　　　        有一通帶且該通帶具有一中心波長，且該中心波

　　　        長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在

　　　        量值上移位小於13nm。

     請求項27:如請求項25之光學濾波器，其中該等氫化矽層之

              一折射率大於3。

　 ㈢舉發證據技術分析:

   ⒈證據2係1995年3月14日公告之美國第5,398,133號「HIGH E

　　 NDURANGE NEAR-INFRARED OPTICAL WINDOW」專利案，其公

　　 告日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)可為系爭專

　　 利相關之先前技術。證據2第5欄第28至60行揭露「除了近

　　 紅外光流線式濾光器外，還可以使用疊加原理實現其他類

　　 型的光學濾光器。當圖4中所示的近紅外光流線式濾光器的

　　 基板背面用低通濾光器28塗佈時，得到窄帶通濾光器。窄

　　 帶通的位置係藉由近紅外光高通濾光器26和低通濾光器28

　　 的層的數量和厚度而確定。圖10顯示基於本發明的窄帶通

　　 濾光器的結構的截面圖。近紅外光高通濾光器有14層，低

　　 通濾光器28有13層。表3描述了13層低通濾光器的結構參數

　　 ，其中a-SiNx:H作為離基板最遠的最後一層圖11顯示基於

　　 本發明的低通濾光器28的透射率。在800-980nm波長範圍內

　　 ，透射率超過95%並且與圖5中所示的近紅外光流線式濾光

　　 器的透射帶重疊。在1040-1500nm波長範圍內，透射率幾乎

　　 等於零。因此，一部分近紅外光被阻擋。圖12顯示基於本

　　 發明的窄帶通濾光器的透射率。800-1000nm範圍內的透射

　　 率峰值為99.23%，帶寬為185nm，具有近似矩形的形狀」，

　　 證據2主要圖式如本判決附圖二所示。

   ⒉證據4為2001年1月26日出版之「H Angus Macleod THIN-F       ILM OPTICAL FILTERS Third Edition｣教科書第283至292

     頁，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，

     可為系爭專利相關之先前技術。如果在空氣中的入射角為

     Θi，，以及Δg以Θi和n*之形式

     求出。傾斜之效應，接著，此理想的濾光片可以從入射角

     與隔離層折射率的知識中被簡單的估計出來。對於小入射

     角，可得到相移為：

     

     這裡隔離層折射率n*決定它如何靈活的傾斜：較高的折射率影響濾光片較少。對於真實的濾光片而言，反射器也受到傾斜的影響，因此計算峰值波長的變化就更投入。然而，Pidgeon和Smith表明，這種相移類似於從具有隔離層折射率n*的理想濾光片中所得到，濾光片層的高折射率和低折射率之間的中間的n*稱為有效折射率。有效折射率的概念適用於相當高的入射角度，高達20度或30度，甚至更高，具體取決於組成濾光片的多層的折射率(證據4第284頁第1至15行)。對於第一階濾光片　　　　　　　　　　　

　　 這是Pidgeon和Smith獲得的結果。當m→∞，則n*→nH，如同我們所預期(證據4第286頁第5至8行)。證據4主要圖式如本判決附圖三所示。　　                     

   ⒊證據5為2007年5月4日公開之「Reduced angle-shift infrared bandpass filter coatings」技術文獻，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，可為系爭專利相關之先前技術。在整個堆疊設計中使用高折射率材料可以大大提高給定塗層厚度下的性能，或者大大降低實現設計所需的總厚度。證據5討論了通過多層氫化矽實現的幾種設計，這些設計展示了在傾斜入射角下的改進性能(參證據5摘要)。

   ⒋證據6為2009年3月18日公開之中國第CN101389982A號「分色镜」專利案，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，可為系爭專利相關之先前技術。證據6提供一種即使雜散光的入射角變大，亦能使雜散光難以透射的分色鏡。玻璃等透明基板(1)的一面形成有第1多層膜濾波器(2)，在另一面形成有第2多層膜濾波器(3)。將多層膜濾波器(2)作為低通濾波器，將多層膜濾波器(3)作為高通濾波器。並將多層膜設計成因入射角的變化導致的分光透射特性的偏移，在多層膜濾波器(3)大於在多層膜濾波器(2)。從而，即使在多層膜濾波器(2)產生因分光透射特性的偏移而應被遮光的波長透射的情形，亦能借助多層膜濾波器(3)的分光透射特性的偏移來遮断該波長的透射。因此，可大幅降低以較大入射角入射的雜散光透射過分色镜的比率。

   ㈣證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合，不足以證明系爭專利請求項27不具進步性: 

   ⒈系爭專利請求項27為依附於請求項25之附屬項，包含請求項27之所有技術特徵，並進一步界定「其中該等氫化矽層之一折射率大於3」。將系爭專利請求項27與證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合比對可知:

　　 ⑴證據2說明書第1欄第60至30行揭露「…窄帶通濾光器…」；證據2說明書第4欄第3至6行揭露「…a-Si：H(即氫化矽層)/ a-SiNx：H…」；證據2圖4揭露「a-Si：H(即氫化矽層)/ a-SiNx：H交互堆疊」：證據2表1揭露層26-2及26-4「a-SiNx：H」的折射率為1.82，層26-3「a-Si：H (即氫化矽層)」折射率為3.62，層26-6「a-SiNx:H」厚度為42.10nm，層26-7「a-Si:H」厚度為85.26nm；證據2圖12及說明書第6欄第1至5行揭露一種窄帶通濾波器，在800~1000nm範圍透射率99.23%，帶寬185nm等內容。

     ⑵由上述內容可知，證據2揭示一種使用複數a-Si：H(氫化

　     矽層)/ a-SiNx：H交互堆疊實現窄帶通濾光器，該「a-S

　     iNx:H」折射率小於「a-Si：H (即氫化矽層)」，該「a-

　     Si：H (即氫化矽層)」的厚度比該複數個「a-SiNx:H」      之至少一者更厚，其中該窄帶通濾波器，在800~1000nm

　     範圍內具有帶寬185nm 。其中， 證據2「窄帶通濾光器

　     」相當於系爭專利請求項27之「光學濾波器」；證據2

　     「a-Si：H (即氫化矽層)」相當於系爭專利請求項27之

　     「若干氫化矽層」；證據2「a-SiNx：H」相當於系爭專

　     利請求項27之「若干較低折射率層」；證據2【該「a-S

　     i：H (即氫化矽層)」的厚度比該複數個「a-SiNx:H」之

　     至少一者更厚】相當於系爭專利請求項27之「該等氫化

　     矽層中之至少一者比該等較低折射率層中之至少一者更

　     厚」；證據2「在800~1000nm範圍內具有帶寬185nm」相

　     當於系爭專利請求項27之「具有與800nm至1100nm之一波

　     長範圍至少部分重疊之一通帶(passband)」；證據2表1

　     【層26-3「a-Si：H (即氫化矽層)」折射率為3.62】相

　     當於系爭專利請求項27之「其中該等氫化矽層之一折射

　     率大於3」，故證據2已揭示系爭專利請求項27依附請求

　     項25「一種光學濾波器，其包含：複數個層，其中該複

　     數個層包括若干氫化矽層及若干較低折射率層，其中該

　     等氫化矽層中之至少一者比該等較低折射率層中之至少

　     一者更厚，且其中該光學濾波器具有一通帶且該通帶具

　     有一中心波長」與「其中該等氫化矽層之一折射率大於

　     3」技術特徵。

     ⑶依上述比對，系爭專利請求項27與證據2之差異在於：證

　     據2未揭示系爭專利請求項27「且該中心波長在一入射角

　     自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」

　     之技術特徵。舉發理由書第54頁第6行雖主張「上述差異

　     技術特徵為功效技術特徵，由結構特徵所產生功效技術

　     特徵，可為所屬技術領域具有通常知識者輕易完成」云

　     云。惟查，上開技術特徵為「必要技術特徵」已如前述

　     ，且系爭專利說明書均未主張「上述差異技術特徵」為

　     原告所稱「功效技術特徵」情況下，原告主張不足採。

     ⑷證據4未教示或建議如何取捨折射率的情況下，證據5揭

　     示在特定入射角48°至42°間具有中心波長為17nm之偏移

　     幅度，但並未揭露在「入射角」為41°至0°時，是否仍一

　     直保持在「具有中心波長為17nm之偏移幅度」，證據6

　     僅為定性教示光學膜厚之比值與中心波長的移位幅度之

　     關係，故證據2、4、5、6均未揭示系爭專利請求項27「

　     上述差異技術特徵」。綜上所述，證據2；證據2、4之組

　     合；證據2、4、5之組合；證據2、6之組合不足以證明系

　     爭專利請求項27不具進步性。

   ⒉原告舉發理由書雖稱：「由證據4、5可知提高折射率層材料之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少，故而此一技術特徵為所屬技術領域具有通常知識者，可運用被舉發案申請時之通常知識輕易完成」、「證據6亦揭露可利用加大高折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度，給予如何減少中心波長偏移幅度之教示…使中心波長在光入射角自0°改變至30°時，移位幅度維持在13(nm)以內」云云（參見乙證1卷第113頁，專利舉發理由書第53至54頁表格內容）。然查，證據4、5、6均未記載請求項27上開技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之『特定數值與範圍』，且原告所謂「提高折射率層材料之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少」、「加大-折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度」云云，僅係定性描述，並非定量描述。從而，證據4、5、6未揭露請求項27上開技術特徵。發明所屬技術領域具有通常知識者，自無從基於證據4、5、6得知請求項27上開技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」，是以原告此部分主張不可採。

　 ⒊原告行政訴訟起訴狀主張依附件1：2009年4月29日公開中國第CN101421641A號專利（本院卷一第93至138頁）及附件2：台灣安捷倫科技股份有限公司」於2011年5月1日所印刷公開的「CARY 4000/5000/6000I系列紫外-可見-近紅外分光光度計」型錄（本院卷一第139至154頁）可證明「利用『光譜儀』對『光學濾波器』進行測試，以取得該光學濾波器於特定入射角所對應的中心波長」為本領域的公知常識，將證據2依上述相同於附件1及2的證據方法，當然也會得到與系爭專利請求項27所界定「中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」完全相同的「測試結果」，又參行政訴訟起訴狀第10頁以附件2之紫外-可見-近紅外分光光度計(光譜儀)配合調整Brewster角支架設定入射角度，可得到中心波長從851.5nm位移至838.5nm的波長-穿透率圖云云(本院卷一第87、90頁)。惟查，原告未舉證以附件2紫外-可見-近紅外分光光度計 (光譜儀)配合調整Brewster角支架對「待測品，即光學濾波器」是否為證據2所實施產品，抑或早於系爭專利優先權日之前，顯然無法將該「待測品，即光學濾波器」視為與證

     據2所實施產品相同，故原告所述不足採。   

七、綜上所述，證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合，不足以證明系爭專利請求項27不具進步性

　　，從而，被告所為系爭專利請求項27舉發不成立之原處分，符合法律規定，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並作成「請求項27舉發成立」之處分，為無理由，應予駁回。

八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資

　　料經本院斟酌後，認與判決結果沒有影響，無逐一論述的必

　　要。

九、結論：本件原告之訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　

中　　華　　民　　國　　112 　年　　10 　 月　　12　　日

                          智慧財產第二庭

                            審判長法  官　彭洪英

                                  法  官　汪漢卿

                                  法  官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形 所  需  要  件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。  

 中　　華　　民　　國　　112 　年　　10 　　月　 23 　日

　　　　　　　　　　　　　          書記官　丘若瑤



